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(57)【要約】
【課題】改良された電離真空測定セルを提供する。
【解決手段】電離真空測定セルは、陽極（３A）と陰極
（４K）とを測定チャンバ（１０７）内に含む。測定チ
ャンバ（１０７）は、外側に向かって陰極（４K）の接
続ロッド（１０４）のための真空気密フィードスルー（
１０３）を有するハウジング（１０１）内に配置される
。測定チャンバ（１０７）は、ロッド（１０４）を、絶
縁性のみであるフィードスルー（１０９）において保持
する。ハウジング（１０１）における測定チャンバ（１
０７）は、解放可能なプラグ接続（１０６）によって交
換され得る。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電離真空測定セルであって、
　ａ）測定されるべき真空のための測定フィッティングを、その一方の端部セクションに
有するハウジングと、
　ｂ）前記ハウジングにおける第１および第２の電極とを含み、それによって、電離空間
が前記ハウジング内に置いてこれらの２つの電極間に形成され、
　前記電離真空測定セルはさらに、
　ｃ）前記電極の一方に対する電気的供給のため、または前記電極の一方それ自体のため
の、絶縁性でありかつ真空気密のフィードスルーを含み、
　前記フィードスルーは絶縁体を有し、
　通って送られる前記供給または前記電極は本質的に軸上の金属ロッドであり、
　前記フィードスルーは、
　ｉ）前記軸と同軸であり、前記ロッドから径方向に離間される内側表面を有するセラミ
ック中空シリンダと、
　ｉｉ）前記ロッドの内側表面に融着され、前記電離空間の方向に面する前記セラミック
中空シリンダの端面から軸方向に後退した第１のガラスリングと、
　ｉｉｉ）前記軸と同軸のシリンダ開口部を有し、前記セラミック中空シリンダの円筒形
の外側表面から径方向に離間される開口内側表面を有する金属フィッティングと、
　ｉｖ）前記セラミック中空シリンダの円筒形の外側表面上に融着される第２のガラスリ
ングとを含み、
　ｖ）前記開口内側表面は前記第２のガラスリングに真空気密で接続される、電離真空測
定セル。
【請求項２】
　前記電極は前記軸に関して同軸で配置され、
　前記第１の電極は、円筒形の内側表面を、前記電離空間に面する電極表面として、前記
軸から径方向に離間された状態で有する、請求項１に記載の電離真空測定セル。
【請求項３】
　前記第２のガラスリングは前記開口内側表面上に融着される、請求項１に記載の電離真
空測定セル。
【請求項４】
　前記第２のガラスリングは、さらなる同軸のセラミックシリンダとさらなる同軸のガラ
スリングとからなる１つ以上の対を介して、前記開口内側表面に、封止された態様で接続
される、請求項１に記載の電離真空測定セル。
【請求項５】
　前記金属フィッティングを通過する前記軸に関して軸方向に平行な方向成分で、各々が
ボア穴軸を規定し、内側ボア穴表面を有する１つ以上の貫通ボア穴が設けられ、
　金属製のフィードスルーロッドが、前記ボア穴の少なくとも一部において、それぞれの
ボア穴軸において配置され、
　それぞれの内側ボア穴表面とそれぞれのフィードスルーロッドとがガラスインサートで
封止された態様で融着される、請求項１に記載の電離真空測定セル。
【請求項６】
　前記金属フィッティングは、前記金属フィッティングの開口部を形成する内側リングを
含み、
　前記金属フィッティングのさらなる部分は、前記軸と同軸のさらなる開口を含み、
　前記内側リングおよび前記金属フィッティングのさらなる部分は、ブリッジ部分リング
によって真空気密に接続され、
　前記ブリッジ部分リングは、接続シーム、または、前記内側リングと前記さらなる部分
とが一体的に形成される場合には一体性を生じさせるリングウェブによって形成され、
　金属ロッドフィードスルーは、前記金属フィッティングの前記さらなる部分に設置され
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る、請求項５に記載の電離真空測定セル。
【請求項７】
　前記内側リングおよび前記金属フィッティングの前記さらなる部分の開口部は、互いに
軸方向に整列されるか、または、軸方向における互いとの関係においてオフセットされる
、請求項６に記載の電離真空測定セル。
【請求項８】
　前記電極の一方に対する前記電気的供給または前記電極の一方それ自体のための、少な
くとも絶縁された真空気密フィードスルーは、前記電離空間に向かう汚染から、さらなる
非真空気密の絶縁されたフィードスルーによってシールドされる、請求項１に記載の電離
真空測定セル。
【請求項９】
　前記絶縁された真空気密フィードスルーから、軸方向において、前記電離空間に向かっ
て離間されて、導電性のプレート構成が設けられ、
　前記導電性のプレート構成は、前記フィードスルーと同軸の開口部を有し、それを介し
て、前記電極の一方に対する前記電気的供給または前記電極の一方それ自体が前記電離空
間に向かって突出し、
　前記開口部は、前記フィードスルーの方向に面する前記プレート構成の表面から突出す
るシリンダによって包囲され、
　前記シリンダは、前記フィードスルーの前記セラミック中空シリンダ内に、接触するこ
となく突出するか、または、前記フィードスルーの前記セラミック中空シリンダを接触す
ることなく越えて外部に突出する、請求項１に記載の電離真空測定セル。
【請求項１０】
　ａ）前記ハウジングは、排気されることができ、測定されるべき真空のための測定フィ
ッティングを有し、
　ｂ）前記第１および第２の電極は、同軸に配置されるとともに、共通の軸を有し、それ
によって、前記測定フィッティングと連通して配置される測定チャンバがこれら２つの電
極間に形成され、
　　前記第１の電極は外側電極を形成し、円筒形の表面を含み、
　　前記第２の電極はロッド形状に設計され、前記軸上に位置し、
　ｃ）絶縁性の真空気密フィードスルーは、前記測定フィッティングの反対側の前記ハウ
ジングの一方端に配置され、
　　前記絶縁性の真空気密フィードスルーは前記軸の周りに配置される絶縁体を有し、
　　ロッド形状の前記第２の電極はこの絶縁体を通って封止される態様で案内され、
　前記電離真空測定セルはさらに、
　ｄ）前記電極の同軸構成を包囲する、少なくとも１つの永久磁石リングを含み、
　　前記少なくとも１つの永久磁石リングは、前記軸との関係において径方向に整列され
る磁化方向を有するとともに、この永久磁石リングを包囲する強磁性ヨークを有し、
　　前記ヨークは、前記永久磁石リングから軸方向に両側に遠ざかるように案内されると
ともに、前記永久磁石リングから予め規定される距離の後、両側において径方向に前記軸
および前記第１の電極に向かって案内され、
　　前記第１の電極は、前記電極の同軸構成の外側電極を形成し、前記ヨークは、両側に
おいて、前記永久磁石リングから離間される２つのリング形状の磁極を形成し、それを介
して、前記永久磁石リングの力線の少なくとも一部が、前記第１の電極を貫通しながら前
記測定チャンバ内で閉じ、
　　リング形状のトンネル型磁界が、前記測定チャンバ内において前記軸の周りで少なく
とも部分的に前記第１の電極を介して形成され、
　　円板形状の強磁性案内手段が、前記ヨークの内部磁極の少なくとも１つの領域におい
て、径方向において、前記軸に向かって配向される状態で配置され、第１および第２の磁
極円板として形成され、その中心は、それぞれ、前記第２の電極を通して案内するため、
および気体の通過を測定するために、前記軸の周りに開口部を有し、
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　　シールド装置が、前記フィードスルーとそれに向かって面する前記第２の磁極円板と
の間において、前記絶縁体の径方向領域において、かつ前記軸と同軸に配置されて、電離
空間を形成する前記測定チャンバからの霧状になった粒子による汚染から前記絶縁体を保
護し、
　　前記絶縁体は、前記第２の電極の方向に面する内側表面を有するセラミックシリンダ
と、その上および前記第２の電極上に融着されるガラスリングとを含む、請求項１に記載
の電離真空測定セル。
【請求項１１】
　ａ）前記ハウジングは、前記ハウジングの一方の端部セクションにおいて測定されるべ
き真空のための測定フィッティングを有し、
　前記電離真空測定セルは、
　ｂ）前記ハウジング内において、気体流のために前記測定フィッティングに接続される
測定チャンバをさらに備え、
　ｃ）前記測定チャンバ内の前記第１および第２の電極は、軸に対して同軸に、かつ互い
に離間して配置され、それによって、前記測定チャンバ内においてこれらの２つの電極間
に前記電離空間が形成され、
　　前記第１の電極は、前記電離空間に向かって面する電極表面として、円筒形の内側表
面を有し、
　　前記測定チャンバは、置換可能な部品として設計される、請求項１に記載の電離真空
測定セル。
【請求項１２】
　前記測定チャンバは、
　ａ）前記第１の電極、
　ｂ）測定チャンバハウジング、または、
　ｃ）前記ハウジングの壁部の少なくとも１つの軸方向部分によって、前記軸に対して径
方向の外側に区画され、
　前記測定チャンバハウジングは、前記ハウジングの内側表面に完全に載置されるか、部
分的に載置されるか、または全く載置されておらず、前記第１の電極から径方向に外方向
にオフセットされた円筒形の内側表面を有する、請求項１１に記載の電離真空測定セル。
【請求項１３】
　前記測定チャンバは、前記測定フィッティングから離れて面する軸方向端部において、
電極の一方に対する電気的供給または電極の一方それ自体のための非真空気密の絶縁性フ
ィードスルー、または、絶縁性でありかつ真空気密でもあるフィードスルーを有する、請
求項１１に記載の電離真空測定セル。
【請求項１４】
　前記測定チャンバは、前記ハウジング内または前記ハウジング上において、接するまで
挿入可能であり、かつ、前記ハウジングに取外し可能にロック可能である、請求項１１に
記載の電離真空測定セル。
【請求項１５】
　前記電離空間内に磁場を生成する磁化構成の少なくとも１つの一部が、前記測定チャン
バの径方向に外側に設けられる、請求項１１に記載の電離真空測定セル。
【請求項１６】
　前記測定チャンバは、非破壊的には解体することができない、請求項１１に記載の電離
真空測定セル。
【請求項１７】
　前記電離真空測定セルは、反転されたマグネトロンセルとして構成される、請求項１に
記載の電離真空測定セル。
【請求項１８】
　ａ）前記ハウジングは、排気され、かつ測定されるべき真空のための測定フィッティン
グを有し、
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　ｂ）前記第１および第２の電極は、同軸に互いに離間して配置されるとともに、共通の
軸を有し、それによって、前記測定フィッティングと連通して配置される測定チャンバが
これら２つの電極間に形成され、
　　前記第１の電極は外側電極を形成するとともに、円筒形の表面を含み、
　　前記第２の電極はロッド形状に設計されるとともに、前記軸上に配置され、
　ｃ）絶縁性の真空気密フィードスルーは、前記測定フィッティングの反対側の前記ハウ
ジングの一方端に配置され、
　　前記絶縁性の真空気密フィードスルーは前記軸の周りに配置される絶縁体を有し、
　　ロッド形状の前記第２の電極はこの絶縁体を通って封止される態様で案内され、
　前記電離真空測定セルはさらに、
　ｄ）前記電極の同軸構成を包囲する、少なくとも１つの永久磁石リングを含み、
　　前記少なくとも１つの永久磁石リングは、前記軸との関係において径方向に整列され
る磁化方向を有するとともに、この永久磁石リングを包囲する強磁性ヨークを有し、
　　前記ヨークは、前記永久磁石リングから軸方向に両側に遠ざかるように案内されると
ともに、前記永久磁石リングから予め規定される距離の後、両側において径方向に前記軸
および前記第１の電極に向かって案内され、
　　前記第１の電極は、前記電極の同軸構成の外側電極を形成し、前記ヨークは、両側に
おいて、前記永久磁石リングから離間される２つのリング形状の磁極を形成し、それを介
して、前記永久磁石リングの力線の少なくとも一部が、前記第１の電極を貫通しながら前
記測定チャンバ内で閉じ、
　　リング形状のトンネル型磁界が、前記測定チャンバ内において前記軸の周りで少なく
とも部分的に前記第１の電極を介して形成され、
　　円板形状の強磁性案内手段が、前記ヨークの内部磁極の少なくとも１つの領域におい
て、径方向において、前記軸に向かって配向される状態で配置され、第１および第２の磁
極円板として形成され、その中心は、それぞれ、前記第２の電極を通して案内するため、
および気体の通過を測定するために、前記軸の周りに開口部を有し、
　　シールド装置が、前記フィードスルーとそれに向かって面する前記第２の磁極円板と
の間において、前記絶縁体の径方向領域において、かつ前記軸と同軸に配置されて、電離
空間を形成する前記測定チャンバからの霧状になった粒子による汚染から前記絶縁体を保
護し、
　　少なくとも前記第１の電極は、置換可能な挿入チャンバに設置される、請求項１に記
載の電離真空測定セル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　定義：
　本記載および特許請求の範囲において、我々は、「フィードスルー」という文言を実質
的にロッド形状の構成要素として理解し、保持構成を用いてこの構成要素をプレート形状
の第２の構成要素に取付け、それはその上においてプレート形状の構成要素を通って突出
する。フィードスルーは、さらに、それがこの構成要素に永久的に接続されるかまたは取
外し可能に接続されるかによって、ロッド形状の構成要素を含むかまたは含まないとして
も理解され得る。いずれにしても、フィードスルー上のロッド形状の構成要素は、フィー
ドスルーの堅固な本体と直接接触している。したがって、ロッド形状の構成要素が通過し
て突出するプレート形状の構成要素における通過しやすい開口部は、ここに用いられる意
味においてはフィードスルーではない。
【０００２】
　フィードスルーが絶縁性であるかまたは絶縁される場合、ロッド形状の構成要素とプレ
ート形状の構成要素との間における絶縁がそれによってなされる。
【０００３】
　フィードスルーが真空気密である場合、導入されたロッド形状の構成要素で、フィード
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スルーを通る、プレート形状の構成要素の一方側から他方側への気体の漏洩は全くないか
または実質的にない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０６１１０８４号明細書
【特許文献２】米国特許第５５６８０５３号明細書
【特許文献３】米国特許第５３１７２７０号明細書
【特許文献４】欧州特許第１５４０２９４号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の局面：
　この発明は、その第１の局面において、電離真空測定セルに関する。それは、ハウジン
グを含み、このハウジングは、その端部セクションにおいて、測定されるべき真空のため
の測定フィッティングを有する。測定フィッティングは、特許請求されるハウジング端部
セクションにおける１つ以上の開口部からなる構成であり、それを介して、測定されるべ
き周囲真空雰囲気がハウジング内に延在する。
【０００６】
　測定チャンバがハウジングに設けられ、測定チャンバ、つまりその内部は、ハウジング
の上記測定フィッティングへの気体流を形成するよう接続される。この接続は、測定チャ
ンバにおいて、周囲雰囲気において測定されるべき圧力の変化がある場合に、圧力が、実
用上遅滞なく、測定されるべきこの圧力に非常に迅速に調整されるようになされる。測定
されるべき圧力は、この場合においては、まさに測定フィッティングのところの圧力であ
る。
【０００７】
　第１および第２の電極が測定チャンバに設けられる。これらの電極は、軸に関して実質
的に同軸に形成され、互いから離間して配置される。
【０００８】
　電離空間が、測定チャンバ内において、これらの２つの電極間に形成され、そこにおい
て、電極間において対応の電位差が与えられると、気体が電離される。電極のうちの第１
の電極は、実質的に円筒形の内側表面を、電離空間の方向に面する電極表面として有する
。
【０００９】
　絶縁性でありかつ真空気密であるフィードスルーが、電極の一方に対する前記電気的供
給または電極の一方それ自体のために設けられ、フィードスルーは、通過して送られる電
気的供給または電極の電位とは異なる電位に設定される、測定セルの部分に関して、絶縁
体を有する。
【００１０】
　そのような電離真空測定セルにおいて電離空間に晒される表面は、損傷、特にデポジッ
トを受けることが知られており、それは、セルを繰返し清掃することを必要とする。これ
は、電離真空測定セルの測定結果によっては、電離真空測定セルおよびプロセスの、対応
する長い運転停止時間を必要とする。
【００１１】
　電離真空測定セルを、時間に関して、平均より長く動作状態に保つという問題を解決す
るために、測定セルは、ここで、置換可能な構成要素としてさらに設計される。
【００１２】
　測定チャンバは、いずれの場合にしても、電離空間および対応の汚染に自由に晒される
実質的に円筒形の、およびしたがって相対的に大きな内側表面を有する第１の電極をいず
れにしても含むため、この発明に従う電離真空測定セルのこの実施の形態によって、必要
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となる、少なくとも上記の大きな面積の電極の、時間の掛かる清掃が、電離真空測定セル
の動作を大きく中断することなく行なわれ得る。上記のセルにおいて、汚染された測定チ
ャンバは、清掃された、または新しい測定チャンバと置換される。
【００１３】
　測定チャンバのためのモジュール式構成要素の概念は、さらに、異なるように想起され
る測定チャンバが、同じ電離真空測定セルにおいて柔軟性を持って用いられること、また
は逆に、同じ測定チャンバが他の態様で異なるように想起される電離真空測定セルにおい
て用いられることを可能にする。
【００１４】
　電離真空測定セルの製造は、一方では、設置モジュールとして、たとえば、一様な外形
を有する異なる測定チャンバを形成することもでき、それと適合する形状を有する電離真
空測定セルの残りの部分、および特定の適用によっては、それぞれの電離真空測定セルは
、対応の測定チャンバと、所望のように柔軟性を持って組立てられるという点において、
より効率的となる。
【００１５】
　矛盾しない場合には、すべての局面下でこの発明に従う電離真空測定セルのさらに言及
されるべきすべての実施の形態と組合せ可能な、この発明に従う電離真空測定セルの実施
の形態では、測定チャンバは、１つの代替物では、本質的に円筒形の内側表面を有する第
１の電極によって、セルの軸に関して径方向に外側に区画される。
【００１６】
　したがって、この電極は、端面を除き、測定チャンバハウジングを実際的に形成する。
電離空間は、測定チャンバの内部と本質的に同一である。
【００１７】
　第２の代替物では、測定チャンバは、ハウジングの内側表面に完全に載置されるか、部
分的に載置されるか、または全く載置されない測定チャンバハウジングによって、軸に関
して径方向に外側に区画され、それは、本質的に円筒形の内側表面を有し、それは第１の
電極から径方向に外方向にオフセットされる。
【００１８】
　したがって、測定チャンバは別のハウジングを有し、それは、電極もハウジングの壁部
も形成しない。それにもかかわらず、この測定チャンバハウジングは、ハウジングの内側
表面上に部分的に載置し得、たとえば、置換動作のために案内されその上に取付けられ得
る。測定チャンバハウジングは、さらに、その外側表面がハウジングの内側表面上に完全
に載置され得る。測定チャンバが配置される部分においては、ハウジングはこの実施の形
態においては事実上二重壁である。
【００１９】
　第３の代替物では、測定チャンバは、ハウジングの壁部の少なくとも１つの軸方向部分
によって、軸に関して径方向に外側に区画される。
【００２０】
　この変形物では、ハウジングの壁部は、測定チャンバが取付けられる部分において、測
定チャンバ壁部によって形成されるか、または、逆に考えると、測定チャンバ壁部は、そ
の部分において、ハウジング壁部の一部によって形成される。
【００２１】
　矛盾しない場合には、上記のすべての実施の形態およびすべての局面下でこの発明に従
う電離真空測定セルのさらに言及されるべきすべての実施の形態と組合せ可能な、この発
明に従う電離真空測定セルの実施の形態では、測定チャンバは、測定フィッティングとは
反対側の軸方向端部において、電極の一方に対する電気的供給または電極の一方それ自体
のための、非真空気密の、絶縁性のフィードスルーを有する。
【００２２】
　電極の一方に対する前記電気的供給または電極の一方それ自体のための上記の非真空気
密の絶縁されたフィードスルーが、測定チャンバにおいて、測定フィッティングとは反対
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側の端部に設けられる場合には、加えて、絶縁されかつ真空気密のフィードスルーが、し
たがって、この電気的供給またはこの電極それ自体のために、測定チャンバ外に設けられ
、したがって、後者と置換可能ではない。しかしながら、上記のフィードスルーの両方が
、同じ電気的供給、または同じ電極に対して設けられるので、２つのフィードスルーは、
一方では、置換可能な測定チャンバの一部であり、他方では測定チャンバの外部にあり、
互いに対して整列されることができ、したがって、汚染に関して、非真空気密である測定
チャンバ側のフィードスルーは、真空気密でもある、測定チャンバ外に配置されるフィー
ドスルーをシールドする。
【００２３】
　したがって、絶縁性の真空気密フィードスルーが汚染からシールドされ、測定チャンバ
の置換で、電離空間に露出されるフィードスルーの表面も置換されることが達成される。
【００２４】
　この場合、測定チャンバ上の非真空気密フィードスルーは、絶縁されかつ真空気密であ
り、測定チャンバとともに置換可能ではないフィードスルーよりも、製造するのに実質的
により簡略であり、より費用効果が大きいと考えられる。しかしながら、より複雑で、よ
り高価な、非置換可能なフィードスルーは、置換可能な、より費用効果的なフィードスル
ーを用いて、汚染からシールドされる。
【００２５】
　１つの代替物では、置換可能な測定チャンバは、測定フィッティングとは反対側の軸方
向端部において、絶縁されかつ真空気密であるフィードスルーを含む。
【００２６】
　上述の第１の代替物に従う、真空気密でもない第２のフィードスルーの提供が、したが
って回避される。
【００２７】
　矛盾しない場合には、すべての既に言及された実施の形態およびすべての局面下でこの
発明に従う電離真空測定セルのさらに言及されるべきすべての実施の形態と組合せ可能な
、この発明に従う電離真空測定セルの実施の形態では、測定チャンバは、測定フィッティ
ング側において、ハウジング内またはハウジング上において、停止部まで挿入可能であり
、ハウジングに取外し可能にロック可能であり、この目的のため、ねじ接続またはカラビ
ナ接続が好ましくは、測定チャンバ、およびハウジング、またはハウジングと測定チャン
バとの間で作用する少なくとも１つの軸方向もしくは径方向のロッキング要素、好ましく
はスナップリングもしくはボールキャッチ構成の間に設けられる。
【００２８】
　矛盾しない場合には、すべての既に言及された実施の形態およびすべての局面下でこの
発明に従う電離真空測定セルのさらに言及されるべきすべての実施の形態と組合せ可能な
、この発明に従う電離真空測定セルの実施の形態では、測定チャンバは、測定チャンバの
径方向に外側に、電離空間において磁界を生成する磁化構成の少なくとも一部を有する。
【００２９】
　磁化構成は、たとえば、各々が強磁性材料から形成される、ヨーク、磁極片、シャント
などのような、受動的な磁界案内要素を伴うかまたは伴わない永久磁石の構成として理解
される。
【００３０】
　第１の局面を有するこの発明に従う電離真空測定セルは、実際上、そのような測定セル
の任意のタイプであり得る。特に、しかしながら、それは、この場合においては、その電
離空間において、電界に加えて、磁界が、さらに、それに対してある角度で生成され、電
離速度を増大させる、測定セルに関する。最後に言及された電離真空測定セルのタイプの
記載に関して、さらなる記載を参照する。
【００３１】
　この発明は、さらに、すべての特許請求される実施の形態の変形物を含む、上記のタイ
プの電離真空測定セルのための測定チャンバにさらに関する。
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【００３２】
　この発明に従って現在実施される電離真空測定セルは、
　ａ）排気されることができ、測定されるべき真空のための測定フィッティングを有する
ハウジングと、
　ｂ）第１および第２の電極とを含み、第１および第２の電極は、本質的に同軸に配置さ
れ、かつ互いから離間され、共通の軸を有し、それによって、測定フィッティングと連通
して配置される測定チャンバがこれら２つの電極間に形成され、第１の電極は外側電極を
形成し、それは本質的に円筒形の表面を有し、第２の電極はロッド形状に設計され、軸上
に位置する。
【００３３】
　さらに、それは、
　ｃ）測定フィッティングの反対側のハウジングの一方端に配置される絶縁性の真空気密
フィードスルーを含み、絶縁性の真空気密フィードスルーは軸の周りに配置される絶縁体
を有し、第２のロッド形状の電極はこの絶縁体を通って案内されて封止を形成する。
【００３４】
　さらに、それは、
　ｄ）少なくとも１つの永久磁石リングを含み、少なくとも１つの永久磁石リングは、電
極の同軸構成を包囲し、軸との関係において本質的に径方向に整列される磁化方向を有し
、この永久磁石リングを包囲する強磁性ヨークを有する。
【００３５】
　ヨークは、永久磁石リングから軸方向に両側に遠ざかるように案内され、長手方向断面
で見て、永久磁石リングから予め規定される距離の後、両側において径方向に軸および第
１の電極に向かって案内され、この第１の電極は、電極の同軸構成の外側電極を形成し、
ヨークは、両側において、永久磁石リングから離間される２つのリング形状の磁極を形成
し、それを介して、永久磁石リングの力線の少なくとも一部が、第１の電極を貫通しなが
ら測定チャンバ内で閉じ、リング形状のトンネル型磁界が、測定チャンバ内において軸の
周りで少なくとも部分的に第１の電極を介して形成される。円板形状の強磁性案内手段が
、ヨークの内部磁極の少なくとも１つの領域において、径方向において、軸に向かって配
向される状態で配置され、第１および第２の磁極円板として形成され、その中心は、各場
合において、第２の電極を通して案内するため、および気体の通過を測定するために、軸
の周りに開口部を有し、シールド装置が、絶縁体の径方向領域において、フィードスルー
とそれに向かって面する第２の磁極円板との間において、かつ軸と同軸に配置されて、電
離空間を形成する測定チャンバからの霧状になった粒子による汚染から絶縁体を保護し、
少なくとも第１の電極は置換可能な挿入チャンバに設置される。
【００３６】
　第２の局面：
　圧力に関して測定されるべき雰囲気に対して開いており、そうでなければ真空気密であ
る電離空間が、電離真空測定セルに常に設けられる。高い電界が間に生成される２つの電
極がその中において活性状態である。必要とされる電位は、したがって、導電性の真空気
密供給部を介して２つの電極の少なくとも１つに供給されなければならないか、またはこ
の電極それ自体がそのようなフィードスルーを介して電離チャンバ内に挿入されなければ
ならない。第２の電極がセルのハウジングの電位のような基準電位で動作しておらず、し
たがって、電極間のセクションが基準電位に関して電気的に浮遊している場合には、その
ようなフィードスルーが第２の電極に対して必要な場合にはさらに設けられることになる
。
【００３７】
　この発明の第２の局面では、新規な、絶縁性の真空気密フィードスルーが、上記の電離
真空測定セルに設けられることになる。
【００３８】
　これは、以下を含む電離真空測定セルによって達成される：
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　ａ）測定されるべき真空のための測定フィッティングを、その一方の端部セクションに
有するハウジングと、
　ｂ）ハウジングにおける第１および第２の電極とを含み、それによって、電離空間がハ
ウジング内においてこれらの２つの電極間に形成され、電離真空測定セルはさらに、
　ｃ）電極の一方に対する電気的供給のため、 または一方の電極それ自体のための、絶
縁性でありかつ真空気密のフィードスルーを含み、 フィードスルーは、電気的供給また
は電極と同じ電位では動作されないセルの他の部分に関して絶縁体を有する。この場合、
通って送られる上記の電気的供給または電極は、本質的に軸上の金属ロッドである。フィ
ードスルーは、
　ｉ）　軸と同軸であり、ロッドから径方向に離間される内側表面を有するセラミックシ
リンダと、
　ｉｉ）　一方側で内側表面に、および他方側でロッドに融着され、電離空間の方向に面
するセラミックシリンダの端面から軸方向に退いて設定される第１のガラスリングと、
　ｉｉｉ）　軸と同軸のシリンダ開口部を有し、セラミックシリンダの円筒形の外側表面
から径方向に離間される開口内側表面を有する金属フィッティングと、
　ｉｖ）セラミックシリンダの円筒形の外側表面上に融着され、好ましくは、同様に、電
離空間の方向に面するセラミックシリンダの端面から軸方向に退いて設定される第２のガ
ラスリングとを含み、
　ｖ）　開口内側表面は第２のガラスリングに真空気密で接続される。
【００３９】
　上記のフィードスルーにおいて確実にされなければならない、小さな体積および表面伝
導率を考慮して、フィードスルーを介する高電圧または電位差の場合に漏洩電流に関する
その絶縁能力も確実にするため、上記の絶縁は、フィードスルー軸に関して相対的に大き
な径方向の延在を有さなければならない。フィードスルーの上記の径方向の延在は、ガラ
ス／セラミック絶縁を用いて、費用効果的に確実にされる。加えて、セラミックシリンダ
が上記のガラスリングを越えて電離空間に向かって突出するという点において、漏洩電流
のための経路が実質的に長くされ、それは、製造において、一方においてはその突出する
シリンダと、退いた形態で製造するのに単純であるガラスリングとを設けることによって
、実施するのが簡単である。ここに記載される本願の第２の局面における電離真空測定セ
ルにおけるフィードスルーの上記の特徴は、矛盾しない場合には、本願の第１の局面にお
ける電離真空測定セルのすべての実施の形態と組合せ可能である。
【００４０】
　言及されるタイプの、この発明に従う測定セルの一実施の形態では、電極は軸に関して
本質的に同軸に配置され、第１の電極は、本質的に円筒形の内側表面を、電離空間の方向
に面する電極表面として、上記の軸から径方向に離間された状態で有する。
【００４１】
　第２の電極が、通過して送られる上記の金属ロッドを形成する場合には、電極構成は、
マグネトロンセルまたは反転されたマグネトロン構成を有するセルにおいて典型的である
ように構築され、この点に関して、以下の説明が参照される。
【００４２】
　第２の電極が、たとえば、第１の電極の本質的に円筒形の内側表面の両端側においてリ
ング形状として設計される場合には、セルは、ペニングセルにおいて典型的であるように
電極構成に関して構築され、この点に関して、以下の説明をさらに参照する。
【００４３】
　本願の第２の局面における電離真空測定セルのこの実施の形態は、さらに、以下におい
て第２の局面において説明されるべき測定セルのすべての実施の形態とも組合せ可能であ
るだけでなく、矛盾しなければ、本願の第１の局面における測定セルのすべての実施の形
態とも組合せ可能であり得る。
【００４４】
　本願の第２の局面におけるこの発明に従う電離真空測定セルの一実施の形態では、第２
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のガラスリングは開口内側表面に融着される。この実施の形態は、矛盾しない場合には、
上記のすべての実施の形態および本願の第１および第２の局面における測定セルのさらに
言及されるべきすべての実施の形態と組合せ可能である。
【００４５】
　矛盾しない場合には、上記のすべての実施の形態ならびに本願の第１および第２の局面
における測定セルのさらに言及されるべきすべての実施の形態と組合せ可能な、この発明
に従う電離真空測定セルの一実施の形態では、第２のガラスリングは、さらなる同軸のセ
ラミックシリンダとさらなる同軸のガラスリングとからなる１つ以上の対を介して、開口
内側表面に、封止を形成するよう接続され、好ましくは、ある対の各さらなるガラスリン
グは、それが融着される対のさらなるセラミックシリンダの、電離空間に向かって面する
端面に関して退いて設定される。
【００４６】
　したがって、上記の軸に関してフィードスルーの径方向において見ると、金属フィッテ
ィングの開口内側表面までのガラス／セラミックの一連のシーケンスが形成され、フィー
ドスルーの実際上任意の径方向の延在が容易に費用効果的に製造され得る。
【００４７】
　上記のフィードスルーが電離空間にその一方側において自由に露出される場合には、対
応のフィードスルー表面上の干渉するコーティング汚染が、したがって、しばしば大きな
問題となる。フィードスルーの径方向の延在が長ければ長いほど、そのような干渉するコ
ーティングの影響はより小さい。この実施の形態では、さらに設けられるセラミックシリ
ンダ／ガラスリングの対は、セラミックシリンダが、ガラスリングに関して前方に、電離
空間方向に、少なくとも設けられる対の一部上において設定される。漏洩電流経路は、し
たがってさらに長くされる。
【００４８】
　さらなるセンサ、たとえば、ピラニセンサまたは容量性膜圧センサが、電離真空測定セ
ル上においてしばしば一体化される。この目的のため、さらなるフィードスルーを、電離
真空測定セル上において金属ピンまたはロッドのために設けなければならない。これは、
上記の両方の電極がセルハウジングに関して電気的に浮遊して動作されることになるとき
、またはハウジングが電気的に浮遊しているとして動作され、接地電位のような基準電位
が上記の電極の一方に与えられるときにもあてはまる。この目的のため、第２の局面にお
いてこの発明に従う電離絶縁真空セルのさらなる実施の形態が提案され、それも、やはり
、矛盾しない場合には、上記のすべての実施の形態ならびに本願の第１および第２の局面
における測定セルのさらに言及されるべき実施の形態と組合せ可能である。したがって、
１つ以上の貫通ボア穴が金属フィッティングを通して設けられ、そのボア穴軸は、フィー
ドスルーの上記の軸と平行であるか、またはそれに対して斜めになっている。言及された
貫通ボア穴は、いずれの場合においても、言及されたフィードスルー軸に平行な、そのボ
ア穴軸の方向的な成分を有する。金属フィッティングを通る、言及された１つまたは複数
のフィードスルーは、各々がボア穴軸を規定する内側ボア穴表面を有し、金属フィードス
ルーロッドは、言及された貫通ボア穴の少なくとも一部において、それぞれのボア穴軸に
おいて配置される。それぞれの内側ボア穴表面およびそれぞれのフィードスルーロッドは
ガラスインサートで融着されて封止を形成する。金属フィッティングが、電離真空測定セ
ルのさまざまな概念に対して、およびすべての概念において用いられるのではない、ある
特定の数の、言及された貫通ボア穴とともに、準標準化されて用いられる場合には、言及
されたボア穴の一部を、特に、電離真空測定セルの１つまたは別の概念に対して、金属フ
ィードスルーロッドを伴うことなく、およびガラスインサートを用いてそれらを閉じて封
止を形成するためだけに設けることが、したがって容易に可能である。
【００４９】
　金属フィッティングの設計変形、または挿入される、さらなるセラミックシリンダ／ガ
ラスリングからなる１つ以上の対によって、非常に変動する材料が、ここまで説明された
フィードスルーにおいて、フィードスルー軸との関係において径方向に外方向に同軸に進
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んで、したがって、少なくとも１つの金属ロッド、次いで第１のガラスリングのガラス、
次いでセラミックシリンダ、次いで第２のガラスリングのガラスというように進んで設け
られる。このフィードスルーは、時として、特にその製造中において、つまり、典型的に
はガラス粉末として与えられるガラスとセラミックまたは金属からなる隣接する表面との
融着中のみならず、おそらくは高温で応力を受ける適用中においても、非一様な熱応力を
受ける。言及されたガラス／金属／セラミックの対は、この場合においては、フィードス
ルーの部品において、特に、言及された材料およびおそらくは実際には絶対的に一様であ
るというわけではない材料も有する異なる熱膨張係数によって引起される高い張力をもた
らす結果となる。
【００５０】
　この結果、ほとんど予測可能でない反りが、金属フィッティング上において、径方向に
おいて外側に最も遠く位置して生じ、それが、深刻な結果を有し得るのは、特に、直近で
言及した実施の形態の変形によれば、ガラスで絶縁された真空気密のさらなるフィードス
ルーが金属フィッティング上に設けられるが、決して必ずしもフィードスルー軸に関して
すべてが等しく径方向に離間されるわけではなく、かつ決して必ずしも金属フィッティン
グ上において方位角的に一様に分布されるわけではない場合である。
【００５１】
　金属フィッティングにおける上記の応力のため、対応の応力が１つまたは複数のガラス
インサートにもたらされる結果となり、それは上述のガラスインサートにヘアラインクラ
ックを生じさせ得る。そのような亀裂は、上述の温度歪みの間または後においてすぐ生じ
なければならないわけではない。蓄積した応力は、しかしながら、実質的に後に、セルの
組立中またはその使用中に、上述の亀裂が、ショックまたは衝撃のような極めて小さな機
械的歪みのために生じ、測定セルの誤った挙動時に複雑な態様でしか認識されないという
結果を有し得る。
【００５２】
　矛盾しない場合には、本願の第１および第２の局面における電離真空絶縁セルのすべて
の上記の実施の形態、ならびにさらに説明されることになる実施の形態とやはり組合せ可
能である、絶縁真空測定セルのさらなる実施の形態においては、金属フィッティングは内
側リングを含み、それは、その内側開口部で金属フィッティングの開口部を形成する。金
属フィッティングは、さらに、言及された内側リングに加えて、さらなる部分を有し、そ
れは、好ましくは外側リングとして形成される。言及されたさらなる部分は、フィードス
ルーの軸と同軸であるさらなる開口部を有する。内側リングおよび金属フィッティングの
さらなる部分はブリッジ部分リングによって真空気密に接続される。ブリッジ部分リング
は、接続シーム、好ましくは溶接シームもしくははんだシームによって形成されるか、ま
たは内側リングと金属フィッティングのさらなる部分とが一体的に形成される場合には、
言及されたワンピース設計を確立するリングウェブによって形成される。
【００５３】
　主には、言及された内側リングと、その内側リングと同軸である開口部を有する金属フ
ィッティングのさらなる部分とは、機能的に２つの独立した部分として考えられ得る。こ
れら２つの部分の封止一体性は上述の接続シームまたは上述のリングウェブによって確立
される。後者は、接続シームの場合にはそれらの材料の結果として、または、フィードス
ルー軸の周りで方位角的に考えて、さらなる部分に関してばね要素のように内側リングに
おいて生ずる張力を散逸させることおよびそれらを上記のさらなる部分に置いて均一に分
散させることの、実際的には張力緩衝ゾーンとしてのウェブ実現例の場合には、それらの
寸法の結果として、可能である。
【００５４】
　フィードスルー軸に関して軸方向に平行な方向性成分を有し、かつ内側ボア穴表面を有
する、上記のタイプの貫通ボア穴が、金属フィッティングにおいてフィードスルーの軸に
関して設けられ、それらが、各々、ボア穴軸を規定し、金属製のフィードスルーロッドが
、これらボア穴の少なくとも一部において、それぞれのボア穴軸において配置され、それ
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ぞれの内側ボア穴表面とそれぞれのフィードスルーロッドとがガラスインサートで融着さ
れて封止を形成する場合、そのようなフィードスルーは、したがって、直近で言及された
実施の形態においては金属フィッティングのさらなる部分に設置される。上記のような金
属フィッティングのさらなる部分における応力の低減およびその均一化のため、フィード
スルーの、特にその製造中における高い温度応力にも係わらず、さらなる部分における上
記のフィードスルー上のガラスインサートは、長い動作時間にわたってであっても損なわ
れないままであり、つまり、亀裂をもたらす結果となる応力はそこには生じも残りもしな
い。
【００５５】
　接続シーム、好ましくは溶接シームもしくははんだシームを用いて、または上記のリン
グウェブの１つを用いて各々が接続される複数の同軸リングを上記の金属フィッティング
上に設けること、および上述の接続シームの１つを用いるかまたは上述のウェブの１つを
用いて、これらのリングのうちの最後のもの、典型的には最も内側のリングから径方向に
最も外側に位置するリングまたは最も軸方向に離間したリングを金属フィッティングのさ
らなる部分に接続することが、全く可能である。したがって、必要である場合には、ベロ
ーと同様の真空気密構造が、オプションとして上記のさらなるフィードスルーを有しなが
ら、ガラスリングと金属フィッティングの剛性のさらなる部分との間に確立される。
【００５６】
　この発明の第２の局面に従う電離真空測定セルの、今言及された実施の形態のさらなる
実施の形態では、金属フィッティングの上記の内側リングと上記の金属フィッティングの
さらなる部分における開口部とは互いの上に軸方向に整列されるか、またはそれらはこの
方向において互いに関してオフセットされる。後者は、構造的に所望される場合には、内
側リングの外側半径が金属フィッティングのさらなる部分における開口部の半径とは独立
して形成され、内側リングまたはさらなる部分が可動に案内されて径方向において互いの
上に取付けられることを可能にする。
【００５７】
　しかしながら、矛盾しない場合には、本願の第１の局面における電離真空測定セルのす
べての実施の形態およびさらに記載されるべき実施の形態と組合せ可能な、本願の第２の
局面における電離真空測定セルのさらなる実施の形態では、電極の一方に対する電気的供
給または電極の一方それ自体のための、少なくとも絶縁された真空気密フィードスルーは
、電離空間に向かう汚染から、さらなる非真空気密の絶縁フィードスルーによってシール
ドされる。
【００５８】
　上記の絶縁性の真空気密フィードスルーの効果は、既に言及したように、電離空間から
放出されて付着される材料でのコーティングのような汚染によって損なわれる。それは、
この発明に従って、特に製造およびしたがって製造コストに関して十分に設計されるが、
このフィードスルーはその二重機能のため複雑なままである、この複雑なフィードスルー
の上記の損傷は、ここでは、最後に言及された実施の形態では、電離空間と上述の二重機
能フィードスルーとの間に設置される、絶縁性であるのみであり、真空気密ではないフィ
ードスルーによってシールドされる。特に、後者は、製造において実質的により複雑でな
いため、このより単純なフィードスルーを用いて、上述の複雑でコストの掛かる二重機能
フィードスルーの効果は、より長い動作時間にわたって維持される。
【００５９】
　矛盾しない場合には、本発明の第１および第２の局面の測定セルのすべての上述の実施
の形態ならびにさらに言及されるべき実施の形態と組合せ可能である、電離真空測定セル
のさらなる実施の形態では、上記のフィードスルーと同軸である開口部を有する導電性の
プレート構成が、電気的な真空気密フィードスルーから軸方向において電離空間に向かっ
て離間されて設けられる。電極の一方に対する電気的供給または電極の一方それ自体はこ
の開口部を通って電離空間に向かって突出する。プレート構成における上記の開口部は、
フィードスルーの方向に面するプレート構成の表面から突出するシリンダによって包囲さ
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れ、それは、フィードスルーのセラミックシリンダ内にそれと接触することなく突出し、
またはフィードスルーのセラミックシリンダと接触することなくそれを越えて外部に突出
する。
【００６０】
　ある本願の好ましい実施の形態では、電離真空測定セルは以下を含む：
　ａ）　排気されることができ、測定されるべき真空のための測定フィッティングを有す
るハウジングと、
　ｂ）　第１および第２の電極とを含み、第１および第２の電極は、本質的に同軸に配置
され、かつ互いから離間され、共通の軸を有し、それによって、測定フィッティングと連
通して配置される測定チャンバがこれら２つの電極間に形成され、第１の電極は外側電極
を形成し、それは本質的に円筒形の表面を有し、第２の電極はロッド形状に設計され、軸
上に位置し、電離真空測定セルはさらに、
　ｃ）　測定フィッティングの反対側のハウジングの一方端に配置される絶縁性の真空気
密フィードスルーを含み、絶縁性の真空気密フィードスルーは軸の周りに配置される絶縁
体を有し、第２のロッド形状の電極はこの絶縁体を通して案内されて封止を形成し、電離
真空測定セルはさらに、
　ｄ）　少なくとも１つの永久磁石リングを含み、少なくとも１つの永久磁石リングは、
電極の同軸構成を包囲し、軸との関係において本質的に径方向に整列される磁化方向を有
し、この永久磁石リングを包囲する強磁性ヨークを有し、さらに、ヨークは、永久磁石リ
ングから軸方向に両側に遠ざかるように案内され、長手方向断面で見て、永久磁石リング
から予め規定される距離の後、両側において径方向に軸および第１の電極に向かって案内
され、この第１の電極は、電極の同軸構成の外側電極を形成し、ヨークは、両側において
、永久磁石リングから離間される２つのリング形状の磁極を形成し、それを介して、永久
磁石リングの力線の少なくとも一部が、第１の電極を貫通しながら測定チャンバ内で閉じ
、リング形状のトンネル型磁界が、測定チャンバ内において軸の周りで少なくとも部分的
に第１の電極を介して形成され、円板形状の強磁性案内手段が、ヨークの内部磁極の少な
くとも１つの領域において、径方向において、軸に向かって配向される状態で配置され、
第１および第２の磁極円板として形成され、その中心は、各場合において、第２の電極を
通して案内するため、および気体の通過を測定するために、軸の周りに開口部を有し、シ
ールド装置が、絶縁体の径方向領域において、フィードスルーとそれに向かって面する第
２の磁極円板との間において、かつ軸と同軸に配置されて、電離空間を形成する測定チャ
ンバからの霧状になった粒子による汚染から絶縁体を保護し、絶縁体は、第２の電極の方
向に面する内側表面を有するセラミックシリンダと、その上および第２の電極上に融着さ
れるガラスリングとを含む。
【００６１】
　既に言及したように、第１の局面において説明された電離真空測定セルの特徴が、第２
の局面において説明された電離真空測定セルと組合せられてもよいのは、そのような組合
せが、当然のことながら、矛盾をもたらさず、それぞれの上記の利点が解体能力およびフ
ィードスルーの両方に関して実現される電離真空測定セルがしたがって設けられる場合で
ある。
【００６２】
　この発明を、さらに、以下において、さらなる実施の形態、例および図面に基づいて、
すべての局面の下、例示の目的で説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１ａ】断面図において、概略的に、かつ単純化された、軸方向磁化を有するリング磁
石を有する、この発明に従うマグネトロン電離真空測定セルの第１の実施の形態を示す。
【図１ｂ】図１のそれと同様の図において、この発明に従う測定セルのさらなる実施の形
態、つまり軸方向において互いから離間され、径方向磁化を有し、外部において包囲する
軟磁性ヨークによって包囲される２つのリング磁石を有するマグネトロン電離真空測定セ
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ルを示す。
【図１ｃ】図１ａのそれと同様の図において、この発明に従う測定セルのさらなる実施の
形態、つまり、軸方向磁化を有し、互いに対して反対に分極され、互いに当接して位置さ
れる、２つのリング磁石を有するマグネトロン電離真空測定セルを示す。
【図２ａ】図１ａのそれと同様の図において、この発明に従う測定セルのさらなる実施の
形態、つまりリング磁石を有するマグネトロン電離真空測定セルであって、リング磁石は
、径方向磁化を有し、外部に配置され、軟磁性ヨークを包囲し、軟磁性ヨークは、リング
磁石の両側において、それから離間される脚型領域を有し、それらは各々、第１の電極に
向かって配向されるリング形状の磁極を形成し、真空ハウジングによって、測定セルの全
構成が包囲され受けられる、マグネトロン電離真空測定セルを示す図である。
【図２ｂ】図１ａのそれと同様の図において、真空ハウジングがヨークそれ自体によって
形成される、この発明に従う測定セルのさらなる実施の形態を示す。
【図２ｃ】図１ａのそれと同様の図において、真空ハウジングが第１の電極と磁石システ
ムの構成または磁化構成との間に配置され、永久磁石およびヨークからなる磁石システム
は真空チャンバの外側において、雰囲気の領域に位置する、この発明に従う測定セルのさ
らなる実施の形態を示す。
【図２ｄ】図１ａのそれと同様の図において、真空ハウジングが第１の電極と同時に形成
され、永久磁石およびヨークからなる磁石システムは真空チャンバの外側において雰囲気
の領域に位置する、この発明に従う測定セルのさらなる実施の形態を示す。
【図２ｅ】図１ａのそれと同様の図において、磁極を有する脚状領域が第１の電極に向か
って湾曲状に案内される、この発明に従う測定セルのさらなる実施の形態を示す。
【図３】図１ａのそれと同様の図において、強磁性案内手段が、測定セルの中央領域にお
いて、ヨークの磁極および／またはリング磁石の磁極より上に配置される、この発明に従
う測定セルのさらなる実施の形態を示す。
【図４】図１ａのそれと同様の図において、磁極と関連付けられるリング磁石および／ま
たは強磁性案内手段が、ヨークの構成内において軸方向に非対称および／または変位可能
に配置される、この発明に従う測定セルのさらなる実施の形態を示す。
【図５ａ】組付けられたリング磁石の一部としてのセグメントを示し、磁化方向がそのセ
グメントの弦と垂直に整列されるセグメントを上面図で示す。
【図５ｂ】径方向に配向される磁化方向を有する、組付けられたリング磁石の一部として
のセグメントを上面図で示す。
【図５ｃ】個々のロッド磁石から組立てられるリング磁石であって、個々のロッド磁石は
同じ方向に磁化されるリング磁石の部分的な図を上面図で示す。
【図６ａ】図１ａのそれと同様の図において、互いから軸方向に離間される２つのリング
磁石がヨークの構成内に示される、この発明に従う測定セルのさらなる実施の形態を示す
。
【図６ｂ】図１ａと同様の図において、軸方向分極を有する１つのさらなるリング磁石が
、各場合において、径方向に磁化されたリング磁石の磁極の両側において、互いに対して
反対の極性で配置され、ヨークの構成内において軸に向かって配向される、この発明に従
う測定セルのさらなる実施の形態を示す。
【図７】断面図において、さらに詳細に、シールド装置を有するフィードスルーを有する
、この発明に従う真空測定セルのさらなる実現例を示す。
【図８】図７に対応するシールド装置を有するフィードスルー領域の断面の詳細図を示す
。
【図９】概略的に、および単純化された形式で、長手方向断面図において、本願の第２の
局面における電離真空測定セルにおいて用いられる、絶縁性の真空気密フィードスルーの
一部を示す。
【図１０】図９のそれと同様の図において、上記の絶縁性真空気密フィードスルーのさら
なる実施の形態を示す。
【図１１】図９および図１０のそれと同様の図に基づく、さらなる側方フィードスルーが



(16) JP 2017-198711 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

設置されるフィードスルーを示す。
【図１２】概略的であり、単純化された形式において、図１１に従うフィードスルーから
発生した、図１１に従う側方フィードスルーにおける、特に熱に関連する機械的応力によ
る損傷を救済または少なくとも低減する、予防手段の第１の実施の形態を示す。
【図１３】概略的な図示に基づく、図１２に従う予防手段のさらなる実施の形態を示す。
【図１４】図１３のそれと同様の図において、上記の予防手段のさらなる実施の形態、つ
まり上記のように、特に熱に関連する機械的張力による、図１１に従う側方フィードスル
ーの損傷を低減するかまたは救済しさえする予防手段のさらなる実施の形態を示す。
【図１５】図１３または図１４のそれと同様の図における、上記の予防手段のさらなる実
施の形態を示す。
【図１６】単純化された形式において、概略的に、この発明の第１の局面に従って、ハウ
ジング部分を有する測定チャンバが置換可能に形成された電離真空測定セルを示す。
【図１７】図１６のそれと同様の図において、測定チャンバが測定セルハウジングにおい
て挿入または後退によって置換可能である電離真空測定セルを示す。
【図１８】概略的に、単純化された形態において、測定チャンバが置換可能であり、絶縁
性の真空気密フィードスルーが、実質上、電離チャンバに関して、置換可能な測定チャン
バ上において非真空気密フィードスルーによって完全に覆われ、したがって、汚染から守
られる、電離真空測定セルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　冷陰極を用いる気体放電の原理に基づく、真空測定のための気体圧力測定セルを用いる
ことが公知である。そのような測定セルは、冷陰極電離真空計またはペニングセルとも称
される。そのような測定セルにおいては、十分に高いＤＣ電圧が２つの電極（陽極、陰極
）間に印加され、それによって、気体放電が点火され維持され得る。放電電流は、次いで
、測定されるべき圧力の尺度となる。
【００６５】
　磁界が、放電セクションの領域において形成され、電子を、それらの経路において、負
極（陰極）から、正極（陽極）に、さらに螺旋形の経路上において案内し、それによって
、電荷の経路が長くされる。このようにして、気体粒子の衝突確率が増大され、電離の度
合が改善される。放電は、したがって、広い圧力範囲にわたって燃焼し、安定かつ再生可
能な態様で振る舞う。
【００６６】
　真空測定装置は、冷陰極を用いる気体放電の原理で機能し、大きくは３つの分類に分け
られ得るが、それらは、とりわけ電極の構成において異なる：
　１．ペニングセル：
　陽極はリング形状シリンダとして設計され、それは、放電空間を包囲し、陰極板は陽極
リングの両端側に配置される。磁力線は陽極リングの軸と平行に延在する。
【００６７】
　２．マグネトロンセル：
　陽極は、中心軸を有する中空のシリンダとして設計され、陰極は中央または軸上にロッ
ドとして配置される。電界の力線は、したがって、径方向に延在する。磁力線はシリンダ
軸と平行に延在する。
【００６８】
　３．反転されたマグネトロン構成を有するセル：
　シリンダの外形はマグネトロンセルにおけるような外形であるが、ただし、陽極をロッ
ド形状の構成として中央に有し、陰極を中空のシリンダとして有する。シリンダの端部側
も、典型的には、陰極電位にある。マグネトロンにおけるように、磁力線はシリンダ軸と
平行に延在し、電界の力線は径方向に延在する。
【００６９】
　電離真空測定セル内において測定されるべき気体に到達可能な空間は測定チャンバを含
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み、その中において、電離空間が陽極と陰極との間に確立される。測定チャンバの内部は
、したがって、電離真空測定セルの実施の形態によっては、電離空間と同一であり得るか
、または、さらに、測定されるべき気体が与えられる空間領域を含み得るが、後者は、そ
こにおいては電離に晒されない。電離空間は、言及されたように、陽極と電極との間に位
置し、反転されたマグネトロンセルでは、陰極によって包囲され、マグネトロンセルでは
、陽極によって包囲される。
【００７０】
　最も一般的に用いられるセル設計は、反転されたマグネトロンのそれであり、というの
も、それは、一般的には、高い真空において、ペニングセルよりも安定した測定信号をも
たらす結果となり、放電は、低い圧力において、より容易に点火し、低い圧力に対する、
より低い測定範囲は、１０-11ミリバールの範囲にまで下げられ得るからである。
【００７１】
　シリンダ軸の方向において気体電荷を維持するために必要とされる磁界は、測定セルに
おいて、１０-1Ｔ（＝１０００ガウス）までの大きさのオーダで必要とされる磁界強度の
ため、永久磁石によって生成され、なぜならば、電気磁石の電力消費は過剰に高く、これ
らは大きな構成を必要とするであろうからである。以下の磁気構成は反転されたマグネト
ロンセルのために用いられる：
　Ａ）　図１ａに従う例として示される概略的な単純化されたセル上において磁化構成１
０５によって示される、軸方向磁化を有するリング磁石。
【００７２】
　Ｂ）　図１ｂに従う例として示される概略的な単純化されたセル上において磁化構成１
０５によって示される、径方向磁化を有する２つのリング磁石。
【００７３】
　Ｃ）　図１ｃに従う例として示される概略的な単純化されたセル上における磁化構成１
０５によって示される、互いに関して反転された極性を有する、軸方向磁化を有する２つ
のリング磁石。
【００７４】
　磁化構成の変形例（Ａ）は、軸方向磁化を有するそのようなリング形状の磁石１は製造
するのに単純であり費用効果的であるという利点を有する、従来的な変形例である。
【００７５】
　軟磁性材料から形成される好適なガイドプレートとの組合せにおいて、一様な有用な力
線１４および磁束密度が、同時に、したがって、電離空間において達成され得る。陰極３
は、既に述べられたように、円筒形に設計され、電離空間２０を包囲する。陽極４は円筒
形の陰極３の軸上に配置される。全体は、軸７との関係において軸方向の極性整列を有す
るリング形状の永久磁石１によって包囲される。図１ａでは、北極はＮと識別され、南極
はＳと識別される。これらの極性は、各場合において、構成内において交換もされ得る。
円筒形の陰極は、さらに、端部側において、軸７の方向に配向されたさらなる電極表面を
有し得、それらは、同じ電位にあり、加えて、電離空間２０に電子を反射し返す。電離空
間は少なくとも１つの開口部を有し、それは、外側に向かって、測定されるべき真空空間
Ｐと連通する。そのような測定セルは、典型的には、陰極３または破線で示されるハウジ
ング１０１の直接上に、取外し可能なフランジ接続を有し、その内に、電極３および４を
有する電離空間２０が位置し、その外側に永久磁石１が配置される。ロッド形状の電極４
は、絶縁性の真空気密フィードスルー１０３によって、電離空間２０内に案内される。フ
ィードスルーは電極３またはハウジング１０１上に載る。
【００７６】
　図１ａに従う電離真空測定セル上においては、ハウジング１０１または陰極３それ自体
が、永久磁石１を有する磁化構成１０３内に測定チャンバ１０７を形成する。測定チャン
バ１０７は置換可能な構成要素として設計され、同時に、好ましくはそうであり、さらに
非破壊的に解体されることができない。いずれにしても、それは陰極３を含み、その設計
によっては、さらに、ハウジング１０１の少なくとも一部を含む。さらに、陽極４を有す
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る絶縁性の真空気密フィードスルー１０３は、置換可能な測定チャンバ１０７の一部であ
り得る。上記の測定チャンバ１０７の置換可能な実施の形態のため、電離空間２０を有す
る測定セルは、たとえば、測定チャンバの清掃が必要になったときに短い間しか停止され
得ず、なぜならば、置換される測定チャンバが測定セルに速やかに設置され得るからであ
る。
【００７７】
　絶縁性の真空気密フィードスルー１０３は、置換可能な測定チャンバ１０７を有する測
定セル概念の場合と、以下に説明されるように、陽極４と同軸のセラミックシリンダと、
陽極４およびセラミック体上に融着されるガラスリングとを基本的に有する、非置換可能
な測定チャンバ１０７を有する測定セル概念の場合との両方において有利に形成される。
上記のセラミックシリンダの外側表面は、第２のガラスリングを介して、図１ａに従って
陽極４の周りで、たとえば陰極３および／またはハウジング１０１の周りで金属フィッテ
ィングに接続される。陰極３は、典型的には、ハウジング電位およびしたがって基準電位
、たとえば測定セルの接地電位に設定されるが、ハウジング１０１に関して電気的に浮遊
状態でも動作し得、それによって、次いで、さらなる、真空気密である絶縁性のフィード
スルーが陰極３の電位を設定することに対して必要とされる。
【００７８】
　変形例（Ｂ）は、図１ｂに従って、２つの径方向に磁化される磁石リングを有し、それ
らは軸方向において互いから離間され、磁気回路の帰還のために、軟磁性材料から形成さ
れる磁化構成１０５のリング形状のヨーク２を介して接続される。変形例（Ａ）と比較し
て、変形例（Ｂ）は外側に向かって、特に径方向において、より小さな漂遊磁界１５を有
する。生成された磁界１５の一部は、電離空間外で閉じ、漂遊磁界１５を形成し、これは
有用な磁界１４に貢献しない。そのような外部の漂遊磁界１５は不利であり、なぜならば
、それらは、そこに位置する装置および処理に干渉し得るからである。より小さな漂遊磁
界１５を外側に有する変形例（Ｂ）は、したがって、この点において、より有利である。
しかしながら、これは、電離空間における同じ磁束密度に対して、より永久的でない磁性
材料が用いられなければならないことも意味する。
【００７９】
　図１ａと関連して述べられたことは、測定チャンバ１０７を置換する能力および絶縁性
の真空気密フィードスルー１０３の設計に関して当てはまる。図１ｂでは、フィードスル
ー１０３は置換可能な測定チャンバ１０７の一部である。
【００８０】
　磁化構成１０５の設計に関し、ＥＰ　０　６１１　０８４　Ａ１におけるLethbridgeの
提案によれば、径方向に配向される磁界を生成するリングセグメントが、さらに、径方向
に磁化されるリングの代わりに用いられ得る。
【００８１】
　変形例Ｃおよび図１ｃに従う磁化構成はDrubetsky & TaylorのＵＳ　５，５６８，０５
３によって提案された。それは、シリンダ軸に関して２つの磁石リング間における高さで
方向を変化させる磁界をもたらす結果となる。シリンダ軸上において、この磁界はこの領
域においては０でさえあり、なぜならば、２つの磁石の磁束は互いに打消し合うからであ
る。この構成の利点は、電離空間２０において所与の磁束密度要件において変形例（Ａ）
と比較して漂遊磁界がより少ないということである。しかしながら、とりわけ、強力な有
用な磁界が電離空間２０において生成されることになる場合には、漂遊磁界は常に依然と
して顕著に存在し、干渉し得、なぜならば、そのとき、外部の漂遊磁界も、対応して、よ
り大きくなり、再び外側領域に入るからである。
【００８２】
　図１ａと関連して述べられたことは、測定チャンバ１０７を置換する能力および絶縁性
の真空気密フィードスルー１０３の設計に関して当てはまる。図１ｃにおいては、フィー
ドスルーは、置換可能な測定チャンバ１０７がフィードスルー１０３を有するハウジング
１０１の一部を含まない限り、置換可能な測定チャンバ１０７の一部ではない。
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【００８３】
　変形例（Ａ）の不利な点は、相対的に強力な磁束密度であり、それらは、図１ａに示さ
れるように、電離チャンバ２０、さらには測定チャンバ１０７、およびさらには測定セル
構成全体の外側にまで延在し、そこにおいて漂遊磁界１０５として生ずる。これは、典型
的な使用の場合において、測定セルの付近に位置する装置、および測定セルの極めて近く
で生じ得る処理、特に、電荷担体または電離された気体を用いて動作される処理に対して
、不利な影響を有する。
【００８４】
　変形例（Ｂ）を用いて、そのような漂遊磁界１５は低減され、なぜならば、ガイドプレ
ート２または軟磁性材料からなるヨークを磁化構成１０５上に配置することによって、磁
気接続が、電離チャンバ２０の外側および置換可能な測定チャンバ１０７の外側において
、２つのリング磁石１の間に形成されるからである。しかしながら、有意な干渉する外部
の漂遊磁界１５が、依然として、図１ｂに示されるように、２つのリング磁石１の各々に
おいて磁極Ｎ、Ｓの間の磁気的な平行な接続の結果形成される。
【００８５】
　変形例（Ｃ）では、気体放電は、中心における２つの磁石リング間での高さにおける、
電界軸に対してもはや垂直ではない小さな磁束密度のため、低く、したがって、測定チャ
ンバ１０７における電離空間２０の一部は使用されないまま残る。加えて、無視できない
干渉漂遊磁界１５が、図１ｃに示されるように、磁石の外側における磁気的な平行な接続
から生じ、それは、図１ａに従って変形例（Ａ）について上で既に説明されたのといくら
か同様に作用する。
【００８６】
　反転されたマグネトロンはしばしばコーティング業界で用いられ、なぜならばそれらは
堅固であるからである。それらは、燃え尽きたり衝撃のため破断され得るフィラメントを
有さない。マグネトロン構成は高い電離度を可能にするので、電離空間２０に自由に露出
される表面の汚染の問題も、そのような表面の材料の霧化および再堆積の増大のため、ま
すます存在する。したがって、反転されたマグネトロンは、既に述べたように、清掃のた
めにモジュラ形式で解体され得るように構築されることにもなるという点で、そのような
問題を制御する試みがなされることになる。
【００８７】
　気体は、プラズマ放電によって分離または活性化される。たとえば、炭化水素がプラズ
マ化学解離反応によって分解または重合される。上記の表面のコーティングもしたがって
生じ得る。測定チャンバは汚される。１０-9Ａの範囲における小さな電流がこの測定方法
においては低い電圧で測定されるため、フィードスルー１０３のわずかな導電性の汚れで
さえも、既に、漏洩電流を引起し得、それは、測定を乱すか、または不可能にさえする。
【００８８】
　一例は、冷陰極／陽極構成のフィードスルー１０３上における必要とされる高い絶縁レ
ベルの問題を示す。１０-9ミリバールの圧力において、測定電流は典型的には１０-9Ａで
ある。１ｋＶの大きさのオーダの陽極電圧で、漏洩電流は、１０12Ωの十分な絶縁抵抗値
の場合における測定電流と同じ大きさのオーダを既に有することになる。
【００８９】
　言及したように、壁部材料も動作によってスパッタリングされる。薄片が生じ得、それ
らは、個々に、または凝集状態で、絶縁性の真空気密フィードスルー１０３を汚し得、漏
洩電流を可能にし得、さらには短絡を生じさせ、したがって、清掃が必要になるまでの測
定セルの使用期間を徹底的に制限し得る。
【００９０】
　一体のままであるかまたは個々のパーツに解体されることになる測定セルの清掃は、非
常に煩雑であり長くなり得る。これは使用コストを増大させる。加えて、そのような清掃
の後は、較正が典型的にはもはや保証されず、つまり、セルはより大きな測定誤差を有す
る。
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【００９１】
　しかしながら、言及されたように、測定チャンバ１０７が、ハウジング１０１の少なく
とも一部および／またはフィードスルー１０３を伴って、または伴わずに、構成要素とし
て直接置換可能である場合には、既に較正された測定チャンバ１０７が短い時間で清掃さ
れるべきものの動作をとり得る。
【００９２】
　測定セルを解体する、より実質的な能力のため、より高い生産コストも生じ、なぜなら
ば、解体され得る封止システムが用いられなければならないからである。解体の後に漏洩
が生じ得る、より大きな確率も生ずる。これは、廃棄可能な部分としてさえ考えられ、耐
漏洩性として設計され得、解体可能であり得ない、置換可能な測定チャンバ１０７の場合
には当てはまらない。
【００９３】
　ＵＳ５，３１７，２７０およびＥＰ　０１　５４０　２９４　Ｂ１が参照され得る。
　既に言及したように、その上において個々に、または組合せにおいて達成される、この
発明の目的は、電離真空測定セルの運転停止時間を短縮すること、および／または１０３
に従う新規な絶縁された真空気密フィードスルーを提供することを含み、それは、特に、
相対的に低い製造支出で、およびしたがって、絶縁および封止要件に関して、相対的に低
い製造コストで、高品質で達成され得る。
【００９４】
　同時に、測定セルの磁化構成が、さらに、十分な実施の形態において提案されることに
なり、それは、マグネトロン構成を含み、そこでは、測定セルの外側における干渉する磁
界が実質的に低減されるかまたは本質的に防止されさえもし得る。
【００９５】
　測定セルは、測定されるべき大きな圧力範囲を検出することができ、高い信頼性および
高い再生産性で動作することになる。さらに、十分な設計では、それは、コンパクトであ
り、費用効果的に生産可能である。たとえば、自己スパッタリング、クラッキングなどに
よる、動作において生ずる汚れは、測定セルの長期のおよび／または頻繁な運転停止時間
をもたらす結果とならないことになる。
【００９６】
　この発明の第１および／または第２の局面において現在実施されるこの発明に従う測定
セルの磁化構成を主に考慮して、以下が当てはまる：
　測定セルは以下を有する：
　ａ）　排気されることができ、測定されるべき真空のための測定フィッティングを有す
るハウジングと、
　ｂ）　第１および第２の電極とを含み、第１および第２の電極は、本質的に同軸に配置
され、かつ互いから離間され、共通の軸を有し、それによって、測定フィッティングと連
通して配置される測定チャンバがこれら２つの電極間に形成され、第１の電極は外側電極
を形成し、それは本質的に円筒形の表面を有し、第２の電極はロッド形状に設計され、軸
上に位置し、測定セルはさらに、
　ｃ）　測定フィッティングの反対側のハウジングの一方端に配置される絶縁性の真空気
密フィードスルーを含み、絶縁性の真空気密フィードスルーは軸の周りに配置される絶縁
体を有し、第２のロッド形状の電極はこの絶縁体を通して案内されて封止を形成し、測定
セルはさらに、
　ｄ）　電極に接続される電圧源と、
　ｅ）　電極の間に形成される放電電流を分析するための電流測定手段とを含み、これは
、測定すべき真空圧の関数を形成し、さらに、
　ｆ）　少なくとも１つの永久磁石リングを含み、少なくとも１つの永久磁石リングは、
電極の同軸構成を包囲し、軸との関係において本質的に径方向に整列される磁化方向を有
し、この永久磁石リングを包囲する強磁性ヨークを有し、ヨークは、永久磁石リングから
軸方向に両側に遠ざかるように案内され、永久磁石リングから予め規定される距離の後、
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両側において径方向に軸および第１の電極に向かって案内され、第１の電極は、電極の同
軸構成の外側電極を形成し、ヨークは、両側において、永久磁石リングから離間される２
つのリング形状の磁極を形成し、それを介して、永久磁石リングの力線の少なくとも一部
が、第１の電極を貫通しながら測定チャンバ内で閉じ、リング形状のトンネル型磁界が、
測定チャンバ内において軸の周りで少なくとも部分的に第１の電極を介して形成され、円
板形状の強磁性案内手段が、ヨークの内部磁極の少なくとも１つの領域において、径方向
において、軸に向かって配向される状態で配置され、第１および第２の磁極円板として形
成され、その中心は、各場合において、第２の電極を通して案内するため、および気体の
通過を測定するために、軸の周りに開口部を有し、シールド装置が、絶縁体の径方向領域
において、フィードスルーとそれに向かって面する第２の磁極円板との間において、かつ
軸と同軸に配置されて、電離空間を形成する測定チャンバからの霧状になった粒子による
汚染から絶縁体を保護する。
【００９７】
　このセルにおいては、測定チャンバはこの発明－局面１－に従って置換可能であり、お
よび／または絶縁性の真空気密フィードスルーはこの発明－局面２－に従って設計される
。
【００９８】
　上記の磁化構成はマグネトロンを形成する。ある場合では、第１の外側電極は陽極とし
て動作可能であり、第２の内側電極は陰極として動作される。しかしながら、非常に好ま
しい構成は反転されたマグネトロンを形成する。この場合、外側の第１の電極は陰極とし
て動作され、それと同軸の内側電極は陽極として動作される。反転されたマグネトロンと
呼ばれるこの構成では、放電効率は実質的によりよく、より安定している。好ましくは中
央に配置される陽極は、好ましくはロッド形状に設計される。
【００９９】
　磁化構成は、常に、測定チャンバの外側に軟磁性材料を有する。両側の、磁極の間にお
ける磁気接続は、軟磁性材料を介して延在する。磁化構成は、したがって、干渉する漂遊
磁界を外側方向に生成することを防がれ、またはそのような磁界は少なくとも最小限にさ
れる。電離空間内では、対照的に、少なくとも２つのリング形状の、トンネル型の磁界構
成が、一方向に配向され、第１の電極の領域を介して形成され、各々が軸方向成分を有す
る。力線は少なくとも１つの永久磁石の内側磁極から内方向に進み、第１の電極を貫通し
、それらは軟磁性または強磁性ヨークの磁極を介して磁石の両側において閉じ、なぜなら
ば、それらは再び第１の電極を貫通するからである。この場合において、力線は電離空間
内において磁石の高さで方向を変え、それによって、２つの近接するトンネル型の磁界は
それらの極性において反対に延在する。互いに対して近接して位置する、少なくとも２つ
のリング形状の、環状体の放電が、したがって、第１の電極を介して生ずる。そこにおい
て回転する電子は、断面図で見て、力線に沿って横方向に前進後退して振動し、リングの
内側で反対方向に円形に回転し、したがって延長される滞留時間のため、高い電離度を引
起す。
【０１００】
　フィードスルー１０３上において十分な絶縁および真空気密を確実にするため、それは
ガラス／セラミック複合体として構築される。
【０１０１】
　フィードスルーの内側ガラスリングに加えて、隣接するセラミックシリンダがその上に
設けられ、それによって、漏洩経路が効率的かつ費用効果的に長くされ得る。陽極領域に
おけるフィードスルーは、動作中における最も高い陽極電圧をおおよそ表わす５ｋＶまで
耐えることができなければならない。測定セルの下側測定範囲端、典型的には１０-9ミリ
バールにおいては電離電流は１０-10～１０-9Ａの範囲であるので、絶縁抵抗は１０13Ω
の範囲において値を取らなければならず、したがって、漏洩電流は、測定電流に関して測
定セルの感度を制限しない。
【０１０２】
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　本願の第１および／または第２の局面における予防策をさらに有する上記の測定セルは
、測定チャンバが少なくとも１５０℃またはさらには２５０℃まで加熱されることを可能
にする。過剰圧力は１０バールまで許容可能であり、漏洩率は１Ｅ－９ミリバール１／ｓ
未満である。
【０１０３】
　フィードスルーは、金属フィッティングとして、金属リングを含み、好ましくはそれは
ステンレス鋼から形成され、特に、非磁性ステンレス鋼（１．４４３５、ＡＩＳＩ３１６
Ｌ）から形成される。リングは特に好ましくはハステロイから形成される。ハステロイＣ
－２２（ＮｉＣｒ２　１　Ｍｏｌ　４Ｗ，２．４６０２）はニッケル－クロム－モリブデ
ン－タングステン合金である。それは、優れた溶接性を伴って非常に耐腐食性である。
【０１０４】
　ハステロイＢ３（ＮｉＭｏ２９Ｃｒ、２．４６００）は硝酸および他の酸に対して非常
に十分な抵抗を有するニッケル－モリブデン合金である。両方のハステロイとも非磁性で
ある。
【０１０５】
　フィードスルーの絶縁体は上記のガラス／セラミック複合体からなる。ガラスは、好ま
しくは、コバールショット８２５０またはＢＨ－７　Ｎｉｐｐｏｎガラスのような適合さ
れた熱膨張係数を有する。セラミックシリンダは好ましくはＡｌ２０３からなる。このセ
ラミックは、驚いたことに、ガラスのそれを超える電気的絶縁強度の増大を可能にする。
ガラス絶縁体を越えて突出するセラミックシリンダの部分は、ガラスリングに沿った漏洩
経路と少なくとも同じ長さかまたはそれより長くなることになり、したがって、漏洩経路
を十分に延在させ、したがって、漏洩電流を低減する。フィードスルーの中央では、ロッ
ド形状の陽極が、封止を形成するようガラスリングのガラスと融着され、送られ、固定さ
れる。陽極の直径はたとえば１ｍｍである。それは好ましくはハステロイＣ２２からなる
。
【０１０６】
　加えて、さらなるフィードスルーピンがフィードスルーの周囲上に、つまり金属フィッ
ティングを通して配置され得る。それらは、ピラニまたは膜圧センサ、たとえば容量性膜
圧センサなどの、測定セルのハウジングに選択肢的に配置される予備センサに、もしくは
そのような予備センサから、電気信号を通して伝えるために用いられるか、または陰極の
電位を設定するために用いられる。それらは予備センサの構造のための支持体としても有
利に働く。そのようなセンサは、本願の両局面においてこの発明に従う測定セルにおいて
、直接リング形状のキャビティ内において、フィードスルーおよび突出するセラミックシ
リンダに近接して、特に有利に配置され得る。
【０１０７】
　現在想起されるタイプの測定セルは、フィードスルーの方向において第２の磁極円板の
中央開口部の周りにおいて、少なくとも１つの第２のシリンダが軸に対して同軸に配置さ
れ、それはセラミックシリンダ内に重なりを伴って突出し、２つのシリンダはその重なり
の領域において互いから離間され、それらは接触せず、径方向に隙間が形成されるという
点において補われる。このようにして、一方では、電離空間からの霧化された粒子のため
の経路が長くされ、他方では、フィードスルーの絶縁体がシールドされる。実質的なシー
ルド効果が斯くして生じ、それは、フィードスルー上における絶縁体表面のコーティング
または汚染を実質的に低減するかまたは遅延する。シリンダの対を有する提供された基本
的な設計に加えて、さらなる、または複数のシリンダが、さらに、側部の一方のみまたは
両側において用いられ得、それらは、互いと離間される態様で互いにおいて係合し、それ
によって、ラビリンスの経路がさらに長くされ、シェーディング効果がさらに改善され得
る。
【０１０８】
　第１および／または第２の局面におけるこの発明の一実施の形態では、陰極は、別個の
管部分またはシリンダとして、たとえばシートメタルの形式で設計され、それは、管部分
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の両側に配置される磁極円板によってハウジング（１０１参照）の内側壁から離間されて
保持され、隙間形状の線がハウジングと管部分との間に横方向に形成され、測定チャンバ
（１０７参照）はしたがって包囲される。磁極円板は円周の周りにおいてそれらの周囲上
にウェブを有し、それは、測定気体が測定入口から隙間を介してフィードスルーまで伝え
られることを可能にする。この構成も、この発明に従う置換可能な測定チャンバの一実施
の形態を形成し、それは、測定チャンバの汚れが過剰に大きなときに容易に置換および交
換され得る。置換可能な測定チャンバは、異なる処理における測定セルの使用によって、
異なる材料から製造されもし得る。たとえば、置換可能な測定チャンバにおける陰極は、
チタンプレートから製造され得る。所望されない気体はスパッタリングして飛ばされたチ
タンの属性によって、結合されるか汲み出され得る。汲み出し効果は、選択肢的に、測定
セルの較正のためのファームウェアにおいて考慮され得る。
【０１０９】
　我々は、ここで、さらなる図面および例を参照する。
　マグネトロン磁化構成１０５を有する電離真空測定セル３０のある実施形態が、図２ａ
において、概略的に、単純化された形式で、断面図において一例として示される。
【０１１０】
　ハウジング１０１は測定フィッティング８を有し、これは測定されるべき真空に接続さ
れ得、これによって、ハウジング１０１はしたがって排気される。このハウジング１０１
と測定されるべき真空を有する容器との間の接続はたとえば封止フランジ１１を介して製
造される。真空測定セル３０はハウジング１０１を含み、２つの電極３、４および磁化構
成１０５を有し、ハウジング１０１はこの実施の形態においてはそれらを包囲する。磁化
構成１０５は、永久磁石リング１および強磁性材料から形成されるヨーク２を含む。強磁
性材料は、金属製材料（強磁性）およびセラミック材料、たとえばフェライトの両方を含
み得る。
【０１１１】
　第１の電極３および第２の電極４は実質的に同軸に、かつ互いから離間して配置され、
共通の軸７を有する。このようにして、電離空間２０はこれら２つの電極間に形成される
。この空間は、次いで、測定フィッティング８と連通して配置される。第１の電極は外側
電極を形成し、本質的に円筒形の表面を有する。第２の電極４も円筒形またはロッド形状
として設計され得、中央において、軸７に位置して有利に配置される。
【０１１２】
　両方の電極は、ハウジング１０１上における真空気密の電気的フィードスルー１０５Ａ
、１０５Ｋを介して電気的な供給を受け得る。この目的のため、電圧源が電極２、３に接
続される。電流測定手段１７は、電極３、４間に形成される放電電流、つまり放電を解析
するために用いられる。この放電電流は、測定されるべき真空圧力の関数に対応し、電子
的に解析され、さらなる使用のために供給される。少なくとも１つの永久磁石リング１が
、軸との関係において本質的に径方向に整列される磁化方向１３を有して電極３、４の同
軸構成を包囲する。この永久磁石リング１は、さらに、磁界を案内するための強磁性材料
からなるヨーク２によって包囲される。ヨーク２は両側において軸方向に永久磁石リング
１から遠ざかるように案内され、永久磁石リング１から予め規定された距離ｄの後、両側
において、径方向に、軸７および第１の電極３の方向に案内される。あるタイプのＵ形状
のヨークがこのようにして断面図において生じ、それは、磁極９ａおよび９ｂを、両側に
おいて、永久磁石リング１から離間して形成する。この場合において、第１の電極３は、
電極３、４の同軸構成の外側電極である。永久磁石１の力線の少なくとも一部、放電に対
して決定的である有用な力線１４が、したがって、第１の電極を貫通し、電離空間２０内
において永久磁石リング１の磁極およびヨーク２のそれぞれの磁極９ａ、９ｂを介して閉
じ、好ましくはリング形状のトンネル型磁界１４が第１の電極３を介して電離空間２０内
に形成される。図２ａに従う構成では、トンネル型磁界１４は、各場合において、永久磁
石リング１の両側に形成され、つまり、２つのリング形状または環状体の磁界１４は力線
プロファイルの反対の極性を有する。
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【０１１３】
　外側の第１の電極３は好ましくは陰極として動作され、内側の第２の電極４は好ましく
は陽極として動作される。
【０１１４】
　永久磁石リング１は径方向に磁化され、好ましくはネオジウム、サマリウムなどのよう
な希土類元素の群の磁性材料を含有する。製造を単純にするため、リングは、個々のパー
ツから、たとえば、セグメントおよび／または個々の矩形の磁石からも組立てられ得、そ
れらは、次いで、図５ａ～図５ｃに示されるように、リング形状に連結される。磁化は、
示された矢印方向において、図５ａのセグメントの場合には一様な方向において、または
図５ｂのセグメントの場合には径方向において行なわれる。図５ｃの場合、個々の、たと
えば矩形の磁石はリング形状に連結される。長さｈは、そのとき、個々のピースにおける
幅よりも長い。磁性リング１の厚みは好ましくは幅ｈほど大きくない。
【０１１５】
　Ｕ形状ヨーク２の形状は、軸７が位置する部分的な面において少なくとも部分的に角度
を付けられ、永久磁石リング１の両側において軸方向において距離ｄのところで、このよ
うにして生ずるヨーク２の脚部は径方向において測定セル３０の軸７方向を指し、各々、
その中において両側にリング形状の磁極９ａ、９ｂを形成し、それは第１の電極３の方向
に案内される。この角度付けは、好ましくは、図２ａ～図２ｄ、図３、図４、図６に示さ
れるように垂直に設計される。ヨークの磁極９ａ、９ｂおよび永久磁石リングの内側磁極
は好ましくは軸７との関係において等しく離間される。しかしながら、ある場合では、そ
れらは、たとえば図２ｂに示されるように互いとの関係においてオフセットされ得る。た
とえば、ヨーク２の一方の磁極９ｂは、下側領域において、その中において軸７方向に案
内される。すべての磁極が第１の電極３の領域において可能な限り近く位置して配置され
て磁界を最適に案内し用いることができれば有利である。ヨークの磁極９ａ、９ｂは、好
ましくは、磁界１４がその中において第１の電極３を通過するように配置される。有用な
磁界１４は、したがって、永久磁石リング１の磁極から離れて第１の電極３を通過して至
り、電離空間２０内においてヨーク２の２つの磁極９ａ、９ｂを介して弧の形状で閉じ、
なぜならば、それは再びそこにおいて第１の電極３を通って案内されるからである。磁界
の第１の電極３への案内は高い放電効率をもたらす結果となる。ある場合では、ヨーク２
の一方または両方の磁極９ａ、９ｂは、さらに、力線１４が、たとえば、図２ｂにおいて
一方の磁極９ａに対する上側領域において示されるように、第１の電極３を部分的にのみ
通過するかまたは全く通過しないように、配置され得る。図２ｂの下側部分では、ヨーク
２は軸に向かって角度付けられ、力線１４もやはりそこにおいて再び第１の電極を通過す
る。この角度付けが円筒形の第１の電極３の両側において行なわれれば有利である。この
場合では、第１の電極３は、あるタイプの閉じたシリンダを形成し、それは、依然として
、測定気体Ｐの供給のための１つの開口部８と、選択肢として第２の電極に供給するため
の電気的な、選択肢的にさらに真空気密のフィードスルーを用いてこのシリンダ内に第２
の電極を取付けるための手段とを有するのみである。ヨーク２の角度付けられた設計に加
えて、それの少なくとも部分も、図２ｅに示されるように、少なくとも部分的に、弧の形
状で、径方向に、第１の軸７または電極３に向かって案内され得る。
【０１１６】
　図２ａに示される例では、測定セル３０、磁化構成および２つの電極３、４の要素は真
空気密ハウジング１０１によって包囲される。このハウジング１０１は、開口部８と、好
ましくはフランジとして設計されるフィッティング１１とを有し、それによって、測定セ
ル３０は封止を形成するよう接続され得、一方で測定されるべき真空体積と連通する。
【０１１７】
　上記のように、図２ａに従う実施の形態では、ハウジング１０１は磁化システム１０５
を包囲する。置換可能な測定チャンバ１０７は、したがって、ここで、軸７に関して電極
３により径方向に区画される。内部が本質的に電離空間２０に対応するこの測定チャンバ
１０７を置換するために、電極４を有する絶縁性の真空気密フィードスルー１０３Aが、
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ハウジング１０１上に残され、それは置換可能な測定チャンバ１０７の部分を形成しない
。さらなる実施の形態（ここでは図示せず）においては、電極４および１０３Aに対応す
る絶縁性の真空気密フィードスルーは測定チャンバ１０７とともに置換可能としても設計
され、なぜならば、上記にフィードスルーはハウジング１０１ではなく電極３上に固定さ
れるからである。図２ａに示されるように、ハウジング１０１の開口部８は、測定チャン
バ１０７が開口部８を通して置換され得るように十分に大きく設計される。他の態様では
、開口部がたとえば図２ｂに示されるように設計される場合には、図２ｂにおいて破線で
示されるように、フランジ１１を取外し可能な態様でハウジングのパーツ１０１Aとして
残りのハウジング１０１上にねじ留めし、それを除去して、測定チャンバ１０７を置換ま
たは交換することが容易に可能である。
【０１１８】
　ハウジング１０１を有する測定セル３０のさらなる考えられ得る設計が図２ｂに示され
る。この場合では、磁化構成１０５のヨーク２は、同時に、接続手段１１が上に配置され
る真空気密ハウジング１０１として設計される。ヨーク２は、ハウジング１０１の一部に
過ぎないこともあり得る。この場合では、ハウジング１０１は、一部では、軟磁性または
強磁性材料から製造され得、他の部分では、非磁性材料、たとえば非酸化物から製造され
得る。
【０１１９】
　置換可能な測定チャンバは、ここにおいて外側で電極３によって径方向にも区画される
。フィードスルー１０３ａは、電極４とともに、置換可能な測定チャンバ１０７の一部で
ある。
【０１２０】
　さらなる変形例では、図２ｃによると、ハウジング１０１は第１の電極３と磁化構成１
０５との間に配置され得、磁化構成１０５は、真空包囲ハウジング１０１の完全に外側に
あることになる。これは、磁化構成１０５の材料が電離空間２０を汚したり汚染したりし
て、それによって、測定結果が不利に影響されるかもしれないということはあり得ない、
という利点を有する。
【０１２１】
　置換可能な測定チャンバ１０７はここで外側においてハウジング１０１によって、また
は少なくともその一部によって径方向に区画される。フィードスルー１０３Ａはハウジン
グ１０１上に載り、それによって、電極４およびフィードスルー１０３Ａも、しかしなが
らハウジング１０１とともに、ここでは置換可能な測定チャンバ１０７の一部でもある。
【０１２２】
　図２ｄに従う変形例では第１の電極３も同時に真空気密ハウジング１０１として設計さ
れる。これは、さらに、磁化構成１０５が、真空技術、および加えて真空セル３０のコン
パクトな単純な実施の形態において電離空間２０から分離されることを可能にする。永久
磁石リング１は、ヨーク２の内側において、軸方向において２つの磁極９ａ、９ｂを有す
るそれの脚部間において非対称に配置され得、またはそうであっても、図４において移動
方向を示す矢印１８によって示されるように、変位可能である。磁化構成１０５の属性お
よびしたがって放電はこれによって意図的に影響され得、またはさらに不規則性を正し得
る。最も好ましい場合では、永久磁石リング１はヨーク２の磁極９ａ、９ｂに関して中央
に配置され、ヨーク２の磁極９ａ、９ｂは永久磁石リング１に関して対称に配置される。
図２ｄにおける置換可能な測定チャンバ１０７は外側で電極３によって径方向に区画され
る。フィードスルー１０３Ａは電極上に載り、それによって、電極４およびフィードスル
ー１０３Ａもここにおいては置換可能な測定チャンバ１０７の一部である。
【０１２３】
　磁極から生じ内方向に配向される磁界は、さらなる案内手段によって影響を受けること
により、放電をさらに最適化し得る。たとえば、強磁性案内手段６を、図３および図４に
示されるように、永久磁石リング（１）の内側磁極の領域において、径方向において、軸
７に向かって配向される状態で配置し得る。強磁性案内手段５ａ、５ｂが、さらに、たと
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えば、ヨークの内側磁極９ａ、９ｂの少なくとも一方の領域において、径方向において軸
７方向に配向されて配置され得る。そのような案内手段は、軟磁性または強磁性材料から
シートメタルパーツまたはプレート型のパーツとして製造され得、それらは、たとえば、
円板形状に製造される。開口部を必要に応じてその中に設けて、第２の電極４を通して案
内し、および／または気体交換を可能にする。
【０１２４】
　図３の例を図１ｃに従う電極３の実施の形態と比較した場合、強磁性案内手段５ａまた
は５ｂは図１ｃに従って形成される電極３の端部部分を容易に形成し得ることが即座に明
らかとなり、なぜならばそのような案内手段５ａおよび５ｂは、電極３の電位に設定され
ることによって磁界に関してそれらの導電性を失わないからである。
【０１２５】
　これは、図３に示される案内手段６に対しても当てはまる。それらも電極３の上に容易
に設置され得る。
【０１２６】
　したがって、しかしながら、これらの案内手段５ａ、５ｂ、および／または６は置換可
能な測定チャンバ１０７の一部であり得、なぜならば、それらは、同様に上述の置換可能
な測定チャンバ１０７の一部である上述の一方の電極３とともに置換可能であるからであ
る。
【０１２７】
　磁化構成１０５のさらなる実施の形態が図６ａに示され、そこにおいては、２つの永久
磁石リング１が互いから離間され、反対の極性化を伴って、ヨーク２の内側に配置される
。この構成は、特に強力なリング形状のマグネトロン磁界を、電離空間２０の内側におい
て第１の電極３を介して永久磁石リング１の２つの磁極間に生成する。さらなるリング形
状の磁界が、次いで、各場合において、それに対して両側において延在し、それはヨーク
２の２つの磁極９ａ、９ｂによって終端され、したがって、外方向に出る漂遊磁界が防止
される。必要とされる場合には、磁極が各々交互して配置される２つより多い永久磁石リ
ング１を用いることも容易に可能であるが、２つの永久磁石リング１が好ましい。
【０１２８】
　図６ａにおける置換可能な測定チャンバ１０７は、径方向に外側に電極３によって区画
される。フィードスルー１０３は電極３の上に載り、したがって、電極４およびフィード
スルー１０３はここでは置換可能な測定チャンバ１０７の一部でもある。
【０１２９】
　磁化構成１０５のさらなる実施の形態が図６ｂに示される。
　さらなるリング磁石２１ａ、２１ｂが、軸方向に磁化され、磁石システム内において軸
７に向かう領域において配置され、各場合において、ヨーク２の脚部および磁極９ａ、９
ｂと永久磁石リング１との間に配置される。径方向における磁石リング２１の厚みは好ま
しくは永久磁石リング１の幅ｈの最大で半分である。第１の電極３を介する磁界トンネル
の非常に高い磁束密度はこの構成を用いて達成され得る。もちろん、そのようなリング磁
石２１は、図６ａに従う上記の実施の形態に対応して、２つの永久磁石リング１の間に有
利に配置されることも可能である。
【０１３０】
　図６ｂの置換可能な測定チャンバ１０７は、径方向に、外側において、電極３によって
区画される。フィードスルー１０３は電極１０３の上に載り、それによって、電極４およ
びフィードスルー１０３はここでは置換可能な測定チャンバ１０７の一部でもある。
【０１３１】
　図１ａ～図６ｂに従う実施の形態におけるすべてのフィードスルー１０３は、置換可能
な測定チャンバ１０７がなくても、この発明に従って設計され得、なぜならば、フィード
スルー１０５は、以下に記載されるように、上に記載されるタイプの金属／ガラス／セラ
ミック／ガラス複合体として設計されるからである。しかしながら、置換可能な測定チャ
ンバ１０７を有する実施の形態は上記のように設定されるフィードスルーと容易に組合せ
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ることも可能である。
【０１３２】
　ここまで記載された測定セル３０は、たとえば、２つの電極３、４間、つまり陰極３と
陽極４との間において、３．３ｋＶの電圧を用いて動作される。測定セル３０の動作に対
して好ましい範囲は２．０ｋＶと４．５ｋＶとの間である。
【０１３３】
　重要な部分に関して以下に寸法を記載する。
　第２の電極４（陽極）：
　測定チャンバの内側における陽極の長さ：たとえば２０ｍｍであり、好ましくは１０～
３０ｍｍの範囲である。
【０１３４】
　陽極の寸法：たとえば１．０～１．５ｍｍであり、好ましい範囲は１．０～５．０ｍｍ
である。
【０１３５】
　材料：非磁性（さらに常磁性または反磁性）
　第１の電極（陰極）：
　陰極の長さ：たとえば２０ｍｍであり、好ましい範囲は１０～３０ｍｍである。
【０１３６】
　陰極の直径：たとえば２０～２５ｍｍであり、好ましい範囲は１５～３５ｍｍである。
　材料：非磁性（さらに常磁性または反磁性）。
【０１３７】
　永久磁石リング１：
　軸方向における高さ：たとえば５．０ｍｍであり、好ましい範囲は３．０～１０ｍｍで
ある。
【０１３８】
　径方向における幅ｈ：たとえば５．０ｍｍであり、好ましい範囲は３．０～１０ｍｍで
ある。
【０１３９】
　測定セル全体の寸法（外部の寸法）：
　測定セルの長さ（電極端子を含まず）：たとえば５４ｍｍであり、好ましい範囲は２５
～７０ｍｍである。
【０１４０】
　測定セルの直径：たとえば３０～５０ｍｍであり、好ましい範囲は２５～８０ｍｍであ
る。
【０１４１】
　磁界：
　測定チャンバ内において軸方向において測定されるシリンダ軸の磁束密度は１０ｍＴ（
ミリテスラ）～３００ｍＴの範囲にあり、好ましくは６０～１３０ｍＴの範囲にある。
【０１４２】
　漂遊磁界１５：
　測定セル３０の外側縁部から径方向において３０ｍｍの距離において２．０ｍＴ未満で
あり、好ましくは０．５ｍＴ未満である。
【０１４３】
　測定セル３０の軸方向において前縁または後縁から径方向において３０ｍｍの距離にお
いて２．０ｍＴ未満であり、好ましくは０．５ｍＴ未満である。
【０１４４】
　漂遊磁界は、両方の場合において、最低の値として０の値に達し得ない。これらの達成
可能な最下限値は、最も好ましい場合では、最低で約０．０１ｍＴであり、０．１ガウス
に対応し、それは、おおよそ、地球の表面で測定される地球の磁界の大きさのオーダにあ
る。
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【０１４５】
　このマグネトロン－冷陰極－真空測定セルの高い磁化力の場合においては、さらなる材
料が電極表面から霧化されることが示されている。そのような霧化された材料粒子による
被覆からフィードスルー１０３の絶縁体を十分に保護することが、したがって、特に重要
である。
【０１４６】
　すでに何度も述べたように、第１の電極、つまり陰極が、たとえば、測定セルの残りの
部分内または上において測定フィッティング側において容易に設置され得、挿入可能であ
り、したがって置換可能なユニットを形成する置換可能な測定チャンバの一部として設計
されれば特に有利である。この置換が実行されるのは、測定精度を望ましくなく悪化させ
る具体的に望ましくない度合の汚れが存在するかまたは信頼性のある測定セルの動作がも
はや保証されないときである。
【０１４７】
　この発明に従うある実施の形態変形例における測定セルをここでより詳細に図７および
図８に基づいて記載する。
【０１４８】
　それは以下を含む：
　ａ）　排気されることができ、測定されるべき真空のための測定フィッティング８を有
するハウジング１０１と、
　ｂ）　第１および第２の電極３、４とを含み、第１および第２の電極は、本質的に同軸
に配置され、かつ互いから離間され、共通の軸７を有し、それによって、測定フィッティ
ング８と連通して配置される電離空間２０がこれら２つの電極間に形成され、第１の電極
３は外側電極を形成し、それは本質的に円筒形の表面を有し、第２の電極４はロッド形状
に設計され、軸７上に位置し、測定セルはさらに、
　ｃ）　測定フィッティングの反対側のハウジング１０１の一方端に配置される絶縁性の
真空気密フィードスルー１０３を含み、絶縁真空気密フィードスルーは軸７の周りに配置
される絶縁体４１、４１’を有し、第２のロッド形状の電極４はこの絶縁体を通って案内
されて封止を形成し、測定セルはさらに、
　ｄ）　少なくとも１つの永久磁石リング１を含み、少なくとも１つの永久磁石リングは
、電極３、４の同軸構成を包囲し、軸との関係において本質的に径方向に整列される磁化
方向１３を有し、この永久磁石リング１を包囲する強磁性ヨーク２を有し、ヨーク２は、
永久磁石リング１から軸方向に両側に遠ざかるように案内され、永久磁石リング１から予
め規定される距離ｄの後、両側において径方向に軸７および第１の電極３に向かって案内
され、第１の電極３は、電極３、４の同軸構成の外側電極を形成し、ヨーク２は、両側に
おいて、永久磁石リング１から離間される２つのリング形状の磁極９ａ、ｂを形成し、そ
れを介して、永久磁石リング１の力線の少なくとも一部が、第１の電極３を貫通しながら
電離空間２０内で閉じ、リング形状のトンネル型磁界が、電離空間２０内において軸７の
周りで少なくとも部分的に第１の電極３を介して形成され、円板形状の強磁性案内手段５
ａ、５ｂが、ヨーク２の内部磁極９ａ、ｂの少なくとも１つの領域において、径方向にお
いて、軸に向かって配向される状態で配置され、第１および第２の磁極円板５ａ、５ｂと
して形成され、その中心は、各場合において、第２の電極を通して案内するため、および
気体の通過を測定するために、軸７の周りに開口部３１、３１’を有し、シールド装置４
２、６０が、絶縁体４１、４１’の径方向領域において、フィードスルー１０３とそれに
向かって面する第２の磁極円板５ｂとの間において、かつ軸と同軸に配置されて、電離空
間２０からの霧状になった粒子による汚染から絶縁体４１、４１’を保護する。
【０１４９】
　図７（さらに図３および図４も参照のこと）から、案内手段５ａ、６および５ｂは電極
３に接続され、さらに、測定チャンバ１０７を形成することが認識可能である。それは、
測定フィッティング８を介して後退することによってハウジング１０１に関して構成要素
として取外し可能または置換可能であり、フィードスルー１０３を有する電極４はハウジ
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ング１０１の上に載り、したがって、この実施の形態では、置換可能な測定チャンバ１０
７の一部ではない。測定チャンバ１０７は、ハウジング１０１において、測定チャンバ１
０７上におけるプレート形状の案内手段または磁極円板５ａ、５ｂ、６を含む磁化構成の
作用によってそれ自体が後退され得るように取付けられ、図７に示されるように、スナッ
プリング６８がさらに設けられて、ハウジング１０１において挿入された測定チャンバ１
０７の位置決めをブロックし得る。
【０１５０】
　シールドとして作用するシリンダ４２は、絶縁体としても作用し、フィードスルー１０
３上におけるセラミックシリンダである。絶縁体４１′はガラスリングであり、それは、
一方ではセラミックシリンダ４２の円筒形の内側表面と融着され、他方では電極４と融着
される。
【０１５１】
　絶縁体４１は第２のガラスリングであり、それは、一方の側ではセラミックシリンダ４
２の円筒形の外側表面と融着され、他方では、軸と同軸であるリングとして設計される金
属フィッティング４３またはその中に設けられる開口部の内側表面と融着される。したが
って、この発明は、図７に示される発明に従う測定セルにおいて局面１および２の両方の
下で組合せられた形態において実施される。
【０１５２】
　図７に従う測定セルにおける信号解析を、電圧源１６が電極３、４に接続されるという
点において行ない、放電電流を電流測定手段１７を用いて解析し、放電は電極３、４間に
形成されている。この測定される放電電流は測定されるべき真空圧力の関数を形成する。
【０１５３】
　永久磁石リング１の両側において、磁石ホルダ７０をヨーク２と対向して配置すること
により、永久磁石リング１を精密に適所に保持することができる。永久磁石リング１、ヨ
ーク２および磁石ホルダ７０を有するこの構成はモジュールとしても設計され得、それは
管状のハウジング１０１上で単純に押され得る。位置決めのための停止部としての肩部を
したがってこの目的のためにハウジング１０１の外側周囲上に設け得る。言及したように
、電離空間２０または置換可能な測定チャンバ１０７は、有利に、端部側において区画さ
れ、長さにおいて両側において第１および第２の磁極円板５ａ、５ｂを用いて互いから軸
方向７において離間される。これらの磁極円板は各々ヨーク２の２つの磁極９ａ、９ｂの
領域に配置され、選択肢的に、管状のハウジング１０１の内側壁部が、直接、電極３とし
て、またはハウジング１０１の内側壁部に沿った追加的に挿入された円筒形の電極体とし
て、電離空間２０を包囲し、それを横方向に区画する。
【０１５４】
　ハウジング１０１の内側壁部が電極３を形成する場合には、たとえば、図７において一
点鎖線で示される点Ｓにおける軸方向のねじ接続によって置換可能な測定チャンバ１０７
の一部として電極を形成するハウジングの軸方向セクションを想起することは有利である
。
【０１５５】
　第１の磁極円板５ａおよび第２の磁極円板５ｂは第１の電極３、３′とともに、第２の
電極がそれらから離間された軸７を包囲し、測定チャンバを形成ししたがってそれを区画
する。さらなる磁極円板６が、永久磁石リング１の磁極の領域に有利に設けられる。測定
チャンバ１０７は、したがって、２つの電離空間２０、２０′に分割される。この分割が
、第３の磁極円板６および永久磁石が中央に配置され、それによって２つの電離空間２０
、２０′が第３の磁極円板６との関係において対称に配置され、おおよそ等しい寸法を有
するように行なわれれば、有利である。
【０１５６】
　永久磁石リング１の内側磁極の領域において径方向において軸７に向かって配向される
強磁性案内手段は、第３の磁極円板６として設計され、さらに、第２の電極４を通して案
内するために中央に開口部３１′を有する。
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【０１５７】
　図６ａに従って１つより多い永久磁石リング１が用いられる場合には、さらなる磁極円
板を永久磁石リングの各磁極の領域において用い、それによって、さらなる電離空間を分
割することができる。選択肢的には、しかしながら、磁極円板は永久磁石リングの磁極よ
り上において省略することもできる。対照的に、図７および図８に示される設計は、３つ
の磁極円板および１つの永久磁石リング１を特に対称設計において有し、好まれる。磁極
円板は有利には円形の円板として設計される。
【０１５８】
　図７に示される測定チャンバ１０７の有利な設計では、第１の電極３は、分離したシリ
ンダとして、好ましくはシートメタルの形式で、管状ハウジング１０１の内側壁部から同
軸に離間された状態で配置されて設計される。隙間６３がしたがって間に形成される。電
極シリンダ３は測定チャンバ１０７を包囲し、それは、両側で終端されて、第１および第
２の磁極円板５ａ、５ｂに接続される。隙間６３の幅は、測定チャンバ直径と比較して小
さいが、測定気体を測定入口８から電離空間２０、２０′全体を通してフィードスルー１
０３の領域まで通して案内し分散させるのに十分なコンダクタンスを達成するよう十分に
大きい。
【０１５９】
　第１および第２の磁極円板５ａ、５ｂ、ならびに選択肢的に第３の磁極円板６またはさ
らなる磁極円板、好ましくはその２つが、その周縁部においてハウジング１０１の内側壁
部上に載り、ウェブ３５が隙間６３の領域において磁極円板の周囲上に、中断領域または
開口部とともに形成される。磁極円板の縁部上におけるこれらの開口部によって、測定入
口８から同軸の隙間６３を介して電極シリンダに沿ってフィードスルー１０３までの接続
が確立される。電極シリンダを磁極円板５ａ、５ｂ、６とともに有する測定チャンバのこ
の設計は、したがって、ハウジングに挿入可能でありしたがって容易に置換可能なユニッ
ト、つまり上述の置換可能な測定チャンバ１０７を形成する。この測定チャンバ１０７は
、電離チャンバ２０、２０′が特定の動作時間の後もはや許容できない度合の汚れを有す
る際に、必要に応じて容易に置換され得る。上述のように、さらなる単純化のため、測定
チャンバの位置のための停止部、たとえば位置決め肩部６１がハウジング１０１の内側壁
部上に設けられ得る。
【０１６０】
　置換の間において、測定チャンバ１０７は、それがこの位置決め肩部６１上において停
止するまで、測定入口８を介してハウジング１０１内に単に押される。測定チャンバ１０
７は、次いで、さらに、固定のための要素、たとえばスナップリング６８を用いて、測定
入口８の側においてその位置でさらに固定され得る。
【０１６１】
　磁極円板の少なくとも個々の磁極円板が、中央の開口部３１、３１′、３１″に加えて
、好ましくは１つのさらなる開口部、好ましくは複数の開口部３２、３２′を有すれば有
利である。複数の開口部、たとえばボア穴の場合、それらは、一様に、特にリング形状で
配置されることになる。この場合、とりわけ、測定入口８の方向に面する第１の磁極円板
５ａ、および必要であれば第３の磁極円板６が少なくとも１つのそのようなさらなる開口
部３２、３２′を有し、それらが円板上に分布されれば有利である。電離空間２０、２０
′における測定気体のための透過性はこれらのさらなる開口部を用いて増大される。
【０１６２】
　点火補助部３３（図８を参照）が、ある場合に対しては電離空間２０の内側の領域にお
いて第２のロッド形状の電極４上に配置され得、それを用いて、放電の点火がよりよく開
始され得る。それは、たとえば、小さなプレートのような小さな金属部品からなり、それ
は鋭利な縁部または先端を有し、その上に自由電荷担体の電界放射が電圧パルスを用いて
引起される。
【０１６３】
　既に言及したように、信頼性のある長期の測定セルの機能にとって、フィードスルー１
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０３の絶縁体部分４１、４１′、４２（ガラス／セラミック／ガラス）を特に慎重にシー
ルドすることは非常に重要である。特に好適な設計が図７において、および詳細には図８
において選択される。
【０１６４】
　既に上で言及したように、絶縁部分４２としてのセラミックシリンダは、１つの絶縁部
分４１′、好ましくはガラスリング４１′および４１として設計される両方の絶縁部分を
越えて突出する。金属製の取付リング４３が、金属フィッティングとして、第２の絶縁体
部分４１に接続されて封止を形成し、つまり第２のガラスリングに融着される。金属フィ
ッティング４３は、ここではリング形状であり、フィードスルー１０３を支持する。金属
フィッティング４３は、周囲において、測定入口８と対向するハウジング１０１の一方端
４５で接続されて封止を形成する。ハウジング１０１への４５での接続は有利に溶接され
、特にレーザ溶接される。とりわけ、ステンレス鋼（非酸化物）が金属フィッティング４
３に対する材料として好適であり、電離空間における放電に許し難いほど影響しないよう
に、非磁性鋼が好まれる。ハウジング１０１は、有利には、非磁性のステンレス鋼（非酸
化物）からもなる。
【０１６５】
　少なくとも１つの第２のシリンダ６０が、軸７と同軸で、第２の磁極円板５ｂの中央開
口部３１の周りにおいて、フィードスルー１０３の方向に配置される。この第２磁極円板
５ｂはフィードスルー１０３との関係において位置決めされ、２つのシリンダ４２、６０
の長さおよび直径における寸法決めは、第２のシリンダ６０が第１のシリンダ内に、それ
から離間された状態で突出するように行なわれる。両方のシリンダは、互いに対して、お
よび軸７に対して同軸に配置される。この場合、重複ｂの領域では、２つのシリンダ４２
、６０は径方向に互いから離間され、それらは接触せず、隙間ａが径方向に形成される。
この隙間は真空において絶縁距離を形成する。そのような構成を用いて、絶縁体の表面上
における漏洩距離が長くされ、シールド領域ができ、そこにおいては、霧化された材料は
電離空間を出ることはできない。絶縁体、つまりこの発明に従う設計におけるガラスリン
グおよびセラミックシリンダの表面は、したがって、少なくとも部分的な領域において汚
染から守られたままであるが、少なくとも、導電性の被覆を介し、したがって第２の電極
４からハウジング１０１に向かう考えられ得る漏洩電流のための経路は遮断される。
【０１６６】
　言及したようにガラスは、この発明に従って、絶縁体部分４１、４１′の両方のための
絶縁材料として用いられる。シリンダ４２は、フィードスルー１０３のこの発明に従う設
計においてセラミックから、つまり絶縁材料からもなるため、シールド効果はさらに改善
される。シリンダ４２の絶縁材料はセラミックである。対照的に、第２の磁極円板５ｂ上
の第２のシリンダ６０は有利に金属からなり、それは有利に、強磁性ではない。１対の連
動シリンダ４２、６０の使用に加えて、シールド効果のさらなる改善のために、１つのさ
らなる、またはさらには複数のさらなる連動シリンダが用いられ得る。単一の対のシリン
ダ４２、６０を有する図７および図８に従う示される解決策は、対照的に、特に好適であ
り費用効果的な、実現可能な設計である。
【０１６７】
　２つのシリンダ４２、６０の重なりｂの突出深さはたとえば１．０ｍｍであり、好まし
い範囲は０．１ｍｍ～３．０ｍｍである。径方向における２つのシリンダ４２、６０の間
の距離（隙間）はたとえば０．５ｍｍであり、好ましい範囲は０．２ｍｍ～１０．０ｍｍ
である。
【０１６８】
　この発明に従う設計では、フィードスルー１０７の第１のシリンダは、セラミック、た
とえば、２０℃＞で１０Ｅ１７Ωｍの比抵抗を有し、２００℃で１０Ｅ１３Ωｍを有する
酸化アルミニウムからなる（FRIALIT F99.7, Friatec Elektrische Durchfuhrungen und 
Isolierrohre,セラミック金属複合体成分、1126/3 2 VII 04 Gr.,、パンフレット１２７
９）。この発明に従うフィードスルー１０３の設計では、Schott 8250 Logのようなガラ
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スが第１および第２の絶縁体部分４１、４１′の材料として用いられ、２５０℃でのその
電気的体積抵抗は１０．０Ωｃｍであり（Brochure Schott Technical Glasses,物理的属
性および技術的属性、９０４９１英語０４１００．７ｋｎ／ｌａｎｇ、２０１０）であり
、１０Ｅ１２Ωｍに対応する。
【０１６９】
　加えて、第２の磁極円板５ａと、フィードスルー１０３と、シリンダ４２、６０によっ
て実現される中央に配置されたシールド装置と、ハウジング１０１の内側壁部との間には
、リング形状のチャンバ４７が形成され得、その中にはたとえば予備の真空センサ４８が
配置される。ピラニセンサまたは膜圧センサの使用がその予備的な真空センサとして特に
好適である。センサは、構造が小さく、フィードスルー１０３の領域内においてこのリン
グ形状のチャンバ４７に簡潔に収容され得る。それらは、さらに、シールド装置４２、６
０、つまりこの発明に従う実施の形態においてはセラミックシリンダ４２および金属シリ
ンダ６０によって電離空間からの望ましくない堆積物から信頼性高く保護されもする。
【０１７０】
　加えて、たとえば、特に、ピラニ測定セルはさらなる保護的な構成４９を設けられ得る
。そのような測定セルに対して特に必要とされるフィードスルー要素、つまりフィードス
ルーロッドまたはピン４４が、フィードスルー１０３との組合せにおいて容易に設けられ
得る。そのようなフィードスルーロッド４４は、たとえば、絶縁体部分４１において直接
統合され、および／またはこれは金属フィッティング４３においても好ましい。そのよう
な予備的な真空センサ４８を用いて、真空測定セル３０の使用範囲は実質的に拡大され得
る。そのような組合せ測定セルは、精密に測定可能な真空圧力範囲が実質的に拡大される
ことを可能にする。
【０１７１】
　たとえば、図７および図８に従う、この発明に従う電離真空測定セルの一実施の形態は
以下を含む：
　ａ）　排気されることができ、測定されるべき真空のための測定フィッティングを有す
るハウジングと、
　ｂ）　第１および第２の電極とを含み、第１および第２の電極は、本質的に同軸に配置
され、かつ互いから離間され、共通の軸を有し、それによって、測定フィッティングと連
通して配置される、測定チャンバ内の電離空間が、これら２つの電極間に形成され、第１
の電極は外側電極を形成し、それは本質的に円筒形の表面を有し、第２の電極はロッド形
状に設計され、軸上に位置し、電離真空測定セルはさらに、
　ｃ）　測定フィッティングの反対側のハウジングの一方端に配置される絶縁性の真空気
密フィードスルーを含み、絶縁性の真空気密フィードスルーは軸の周りに配置される絶縁
体を有し、第２のロッド形状の電極はこの絶縁体を通って案内されて封止を形成する。測
定セルはさらに、ハウジング内の測定チャンバと、その中における少なくとも１つの第１
の電極とを含む。
【０１７２】
　測定チャンバは置換可能な構成要素として設計され、および／または絶縁性の真空気密
フィードスルーはセラミックシリンダを有し、それは軸と同軸であり、ロッドから径方向
に離間された内側表面を有し、フィードスルーはさらに、第１のガラスリングを有し、そ
れは、一方側では内側表面に融着され、他方側ではロッドに融着され、電離空間の方向を
向くセラミックシリンダの端面から軸方向に退いて設定される。フィードスルーは、次い
で、さらに、軸と同軸のシリンダ開口部を有し、セラミックシリンダの円筒形の外側表面
から径方向に離間される開口内側表面を有する金属フィッティングを含む。フィードスル
ーは、次いで、さらに、セラミックシリンダの円筒形の外側表面上に融着され、電離空間
の方向に面するセラミックシリンダの端面から軸方向に退いて設定される第２のガラスリ
ングを含み、開口内側表面は第２のガラスリングに真空気密で接続される。本願の第１ま
たは第２の局面およびそれらの組合せに対応する、上述の代替物の両方およびそれらの組
合せにおいては、測定セルはさらに以下を含む：



(33) JP 2017-198711 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

　ｄ）　少なくとも１つの永久磁石リングを含み、少なくとも１つの永久磁石リングは、
電極の同軸構成を包囲し、軸との関係において本質的に径方向に整列される磁化方向を有
し、この永久磁石リングを包囲する強磁性ヨークを有し、ヨークは、永久磁石リングから
軸方向に両側に遠ざかるように案内され、永久磁石リングから予め規定される距離の後、
両側において径方向に軸および第１の電極に向かって案内される。この第１の電極は、こ
の場合において、電極の同軸構成の外側電極であり、ヨークは、両側において、永久磁石
リングから離間される２つのリング形状の磁極を形成し、それを介して、永久磁石リング
の力線の少なくとも一部が、第１の電極を貫通しながら測定チャンバ内で閉じる。リング
形状のトンネル型磁界が、測定チャンバ内において軸の周りで少なくとも部分的に第１の
電極を介して形成される。さらに、円板形状の強磁性案内手段が、ヨークの内部磁極の少
なくとも１つの領域において、径方向において、軸に向かって配向される状態で配置され
、第１および第２の磁極円板として形成され、その中心は、各々、第２の電極を通して案
内するため、および気体の通過を測定するために、軸の周りに開口部を有する。シールド
装置が、絶縁体の径方向領域において、フィードスルーとそれに向かって面する第２の磁
極円板との間において、かつ軸と同軸に配置されて、電離空間からの霧状になった粒子に
よる汚染から絶縁体を保護する。
【０１７３】
　この発明に従うこの測定セルは以下のように改善され得る：
　Ａ）　軸がある部分的な面において、ヨークは、少なくとも部分的に弧の形状において
径方向に第１の電極に向かって案内されるという点。
【０１７４】
　Ｂ）　軸がある部分的な面において、ヨークは、少なくとも部分的にある角度で、好ま
しくは垂直に、径方向において第１の電極に向かって案内されるという点。
【０１７５】
　Ｃ）　軸方向において互いから離間される２つの磁極を有するヨークの内側において、
反対の磁化方向を有する少なくとも２つの永久リングが配置され、各永久磁石リング対は
第１の電極を介してさらなるリング形状のトンネル型磁界を形成するという点。
【０１７６】
　Ｄ）　軸方向において互いから離間される２つの磁極を有するヨークの内側において、
反対の磁化方向を有する２つの永久磁石リングが配置されるという点。
【０１７７】
　Ｅ）　ハウジングが、ヨークを伴う永久磁石リングおよび２つの電極の両方を包囲する
という点。
【０１７８】
　Ｆ）　ヨークはハウジングの一部を形成するという点。
　Ｇ）　ハウジングは第１の電極とヨークを伴う永久磁石リングとの間に配置され、永久
磁石リングおよびヨークは真空によって分離された状態で配置されるという点。
【０１７９】
　Ｈ）　第１の電極はハウジングとして設計されるという点。
　Ｉ）　少なくとも１つの永久磁石リングは、ヨークの内側において軸方向において磁極
との関係において不均等に離間されて配置されるという点。
【０１８０】
　Ｊ）　少なくとも１つの永久磁石リングは、ヨークの内側において軸方向において磁極
との関係において変位可能なように配置されるという点。
【０１８１】
　Ｋ）　径方向において軸に向かって配向されて、強磁性案内手段が永久磁石リングの内
側磁極の領域に配置され、これらは磁極円板として設計され、それは、中央において、第
２の電極を通して案内するための開口部を有するという点。
【０１８２】
　Ｌ）　第１および第２の磁極円板は、それらから離間され軸を第２の電極とともに包囲
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する第１の電極とともに、測定チャンバを形成するという点。
【０１８３】
　Ｍ）　フィードスルーは中央に少なくとも２つの部分からなる絶縁体を有し、それは第
２のロッド形状の電極を第１の絶縁体部分で包囲することにより封止を形成し、第２の絶
縁体部分は第１の絶縁体部分をリング形状で径方向において軸方向に向かって包囲し、少
なくとも１つの第１のシリンダが間に配置されて封止を形成し、それは、軸を同軸で包囲
し、両側において絶縁体部分を越えて突出し、金属フィッティングが、第２の絶縁体部分
に接続されて封止を形成し、フィードスルーを支持し、ハウジングの一方端に接続されて
封止を形成するという点。
【０１８４】
　Ｎ）　フィードスルーの方向において第２の磁極円板の中央開口部の周りにおいて、少
なくとも１つの第２のシリンダが軸に対して同軸に配置され、それは第１のシリンダ内に
重なりを伴って突出し、２つのシリンダはその重なりの領域において互いから離間され、
それらは接触せず、径方向に隙間が形成されるという点。
【０１８５】
　Ｏ）　２つの絶縁体部分の少なくとも一方はガラスから形成されるという点。
　Ｐ）　第１のシリンダは絶縁性の材料、好ましくはセラミックからなるという点。
【０１８６】
　Ｑ）　第２の管部分（６０）は強磁性ではない金属からなるという点。
　Ｒ）　第１の電極は別個のシリンダ部分としてシートメタルの形式で設計され、ハウジ
ングの内側壁部から離間されて配置され、同軸に離間されて隙間を間に形成し、両側にお
いて第１および第２の磁極円板で終端され、その一方で測定チャンバを包囲するという点
。
【０１８７】
　Ｓ）　磁極円板は中断領域を有するハウジングの内側壁部を周囲上において押圧し、ウ
ェブをハウジングの第１の電極の隙間の間における領域において形成し、測定入口からフ
ィードスルーまでの接続を与えるという点。
【０１８８】
　Ｔ）　シートメタルの形式のシリンダ部分は、磁極円板とともに、ハウジングに挿入可
能でありしたがって置換可能である測定チャンバを形成するという点。
【０１８９】
　Ｕ）　第１の磁極円板および選択肢的に第３の磁極円板は少なくとも１つのさらなる開
口部、好ましくはそれより多い開口部を有し、それらは円板にわたって分布して配置され
て電離空間における測定気体のための透過度を増大させるという点。
【０１９０】
　Ｖ）　予備的な真空センサが中に配置されるリング形状のチャンバが、第２の磁極円板
と、中央に配置されるシールド装置と、ハウジングの内側壁部との間に形成されるという
点。
【０１９１】
　Ｗ）　予備的な真空センサはピラニセンサまたは膜圧センサであるという点。
　図９は、図７および図８に基づく既に提示されたフィードスルー１０３の改良物を単純
化された長手方向断面図において示す。絶縁された真空気密の態様で送られる金属ロッド
１１２が、図７に従ってフィードスルー１０３の軸１１０上に、たとえば電極４または電
離空間における電極の一方に対する電気的供給に位置する。
【０１９２】
　セラミックシリンダ１１４は、軸１１０と同軸でガラスリング１１６を介して金属ロッ
ド１１２とポッティングされる。セラミックシリンダ１１４の外部のシリンダ表面は、次
いで、第２のガラスリング１１８を介して金属フィッティング１２０に接続される。金属
フィッティング１２０はこの目的のために軸１１０と同軸の開口部１２２を有し、さらな
るガラスリング１１８が、言及したように、一方側ではセラミックシリンダ１１４の外側
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表面とポッティングされ、他方側では開口部１１２の円筒形の開口表面とポッティングさ
れる。
【０１９３】
　さらに概略的に図１０に示されるように、第１のガラスリング１１６、１１６ａ、１１
６ｂからなる複数の対および関連付けられるセラミックシリンダ１１４ａ、１１４ｂが選
択肢的に設けられてフィードスルー１０３の絶縁性をさらに増大させ得る。
【０１９４】
　図７に基づいて既に説明されたように、シリンダが、図１０において１２５での点線に
よって示されるように、電離真空測定セル上において電離空間側に設けられ、図７のシリ
ンダ６０に対応し、それは、フィードスルー１０３のセラミックシリンダ１１４の内側ま
たは外側においてそれと接触することなく、それを越えて突出する。
【０１９５】
　図９に従ったフィードスルー１０３から進んで、および同じ図示において、図１１は、
たとえば、図７の４８に従うさらなる圧力センサのための、および／または電離空間にお
ける第２のもしくはさらなる電極の電位を設定するための、フィードスルーロッド１３２
を有する１つ以上の側方フィードスルー１３０で補われるフィードスルー１０３を示す。
側方フィードスルー１３０は金属フィッティング１２０に設けられる。その軸１３４は典
型的には軸１１０と平行であるが、ある適用例においては、軸１１０に関して傾けられて
配置され得るが、いずれの場合においても、しかしながら、軸１１０に対して平行な方向
成分を有する。
【０１９６】
　側方フィードスルー１３０は、各場合において、ボア穴１３６によって、金属フィッテ
ィング１２０を通して形成され、そこにおいて、通って送られるべきロッドまたはピン１
３２が同軸で配置される。ロッドまたはピン１３２は、ガラスインサート１３８のガラス
によって金属フィッティング１２０に溶着され、ボア穴１３６において真空気密であり、
ボア穴１３６の壁部から絶縁される。
【０１９７】
　典型的であるように、電離空間側における構成要素に対する最も直接的な可能な電気的
アクセスを与えるよう配置される複数の側方フィードスルー１３０が設けられる場合には
、これらの側方フィードスルー１３０は、最適な位置決めに関し、フィードスルー軸１１
０に関して径方向に等しく離間される必要もなければ、周囲に沿って、つまり軸１１０に
関して方位角的に等しく分布されなければならない必要もない。
【０１９８】
　ある特定の適用例のためにフィードスルー１３０に対して用いられることにならないボ
ア穴１３０が金属フィッティング１２０に設けられる場合には、そのようなボア穴１３０
は、溶融されたガラスインサートによって、図１１において１３０oで破線によって示さ
れるように、封止された真空気密であり得る。
【０１９９】
　図１１を参照すると、フィードスルー１０３は、ロッド１１２、シリンダ１１４、金属
フィッティング１２０およびフィードスルーロッド１３４を適切に位置決めすること、粉
末化されたガラスを対応の開口部／ボア穴に与えること、およびそれらを融着することに
よって、製造による実現が相対的に単純であることが容易に明白である。さらに、この場
合においては、上述のフィードスルー１０３は、製造中において、部分的に非均一に分布
される高い熱応力を既に受けていることが明白である。さまざまな材料の対、つまり金属
／ガラス、次いでガラス／セラミック、セラミック／ガラス、ガラス／金属、金属／ガラ
ス、および最後にガラス／金属がその上に設けられる。これら異なる材料の対、融着ゾー
ンにおける実際の融着動作の千鳥状の形成の可能性、つまり材料遷移、および決して排除
することができないそれぞれの材料、特にガラスまたはセラミックにおける非均質性は、
材料の異なる熱的挙動に加えて、高い応力が側方フィードスルー１３０のガラスインサー
ト１３０に生ずるという結果を有し得る。これらは、熱応力中または冷却中または実質的
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にその後においてのみ、たとえば、測定セルの動作中における機械的な衝撃応力の場合の
両方で、ヘアラインクラックのような亀裂がガラスインサート１３８に生じ得、それは、
それの真空気密性および絶縁能力を、破壊しないとしても、大幅に低減する。
【０２００】
　金属フィッティング１２０における側方フィードスルー１３０でのガラスインサート１
３８における高い応力の問題は、図１２に概略的に示されるように、金属フィッティング
１２０が２つの部分１２０iおよび１２０aに分割され、それらは互いに関して、制限内で
主に径方向において「変位可能」であるという点において基本的に解決される。側方フィ
ードスルー１３０は軸１１０に関して外側部分１２０上に設けられる。２つの部分の金属
フィッティングとしての統合は、２つの部分１２０i、１２０aの、応力緩衝部して作用す
る接続部分１４５によって確立される。この緩衝ゾーンは、金属フィッティング１２０の
上記の部分の間の分離隙間１４０に沿って設けられ得、周方向にこの隙間を橋渡しし、相
対的に展性のある金属を含み得、および／または応力を実際にばねのように吸収して応力
を均一に金属フィッティング１２０の外側部分１２０aに伝達するよう十分に薄く実施さ
れ得る材料ゾーンとして形成される。したがって、図１２に従う実施の形態では、金属フ
ィッティング１２０は、フィードスルー１０３の軸１１０に関して同軸であるリング隙間
１４０によって、好ましくは同じ材料から両方とも形成される内側部分１２０iおよび外
側部分１２０aに分割される。図１１に基づいて既に提案された側方フィードスルー１３
０は外側部分１２０aで載る。金属フィッティング１２０の一体化は、図１２において１
４５で示される緩衝ゾーンとして作用するブリッジ部分によって引起される。
【０２０１】
　リング隙間１４０の代わりに、金属フィッティング１２０の内側部分１２０iおよび外
側１２０aは、図１３に概略的に示されるように、軸１１０に垂直な少なくとも１つの面
Ｅに沿って径方向に変位され得、そこにおいては、２つの部分１２０iおよび１２０aは互
いに対して押圧する。図１３に示されるように、部分１２０を真空気密とともに一体化す
ることは、溶接シームまたははんだシーム１５０などのような周方向の接続シームによっ
て形成され得る。図１３に従う基本的な実施の形態は、２つの部分が径方向に拡張する方
向に案内され、したがって、互いの関係において相互に角度付けられ得ず、特に、図１０
に従うガラスリング１１８および隣接するセラミックシリンダにおいて曲げ張力を引起し
得ない、という利点を有する。
【０２０２】
　図１３に従う実施の形態では、図１２に従う同軸隙間１４０は実際には軸１１０の方向
に向かって開いた空間領域として形成され、それは、内側部分１２０iとの関係において
外側部分１２０aの径方向の変位性に関して隙間機能を仮定し、したがって、図１３にお
いても１４０で示される。
【０２０３】
　図１４に従う実施の形態では、当業者には既に開示されているように、図１２および図
１３に従う実施の形態が組合せられる。一方で、２つの部分は、フィードスルーの軸１１
０に垂直な２つの面Ｅ1およびＥ2に沿ってそれらの径方向の相対的な拡張移動において案
内され、他方では、径方向においてオフセットされたセクションに分割される複数部分の
リング隙間１４０が設けられ、それは、張力を吸収するように必要とされる相対的な径方
向移動度を保証する。図１４によれば、金属フィッティング１２０の一体化は、溶接シー
ムまたははんだシームなどのような軸１１０との関係において周方向である少なくとも１
つの接続シームによって保証され、さらなる接続ウェブも、たとえば、図１４において１
５０bで示されるように、シーム１５０とは反対側の金属フィッティング１２０の側にお
いてセグメント化されて確立され得る。金属フィッティング１２０の一体化を確実にする
ブリッジ部分は、典型的であるように２つの部分１２０aおよび１２０bが等しい電位で動
作されることになる場合には導電性を有さなければならず、かつ真空気密を保証しなけれ
ばならないことに留意しなければならない。
【０２０４】
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　接続シームの代わりに、ブリッジ部分は、図１５に示されるように、ウェブ１４５1お
よび選択肢的に１４５2によって形成され得、それらは、隙間構造１４０を金属フィッテ
ィング１２０の材料に組入れることによって製造される。もちろん、接続シームおよび金
属フィッティング１２０の材料から形成される接続ウェブの組合せも可能である。
【０２０５】
　既に何度か述べたように、電離真空測定セルは、この発明の１つの局面において、測定
チャンバを有し、それは、実際的には置換部分として単純な操作により測定セルから取除
かれ、たとえば、別の測定チャンバと置換され得る。可能な実現例の１つが概略的に図１
６において単純化された形式で示される。測定気体フィッティング８を伴う置換可能な測
定チャンバ１０７は、いずれにしても、破線で示されるように、電極３を有し、したがっ
て、第２の電極を無視して、電離空間を含み、さらに、図１６に従って、ハウジング１０
１のセクション１０１bを含む。軸７に関して同軸であるハウジングセクション１０１bを
さらに含む測定チャンバ１０７は、接続ゾーン１５２で、残りのハウジング部分１０１ａ
に、たとえば、差込みピンフィッティング、ねじ接続などによって接続される。測定チャ
ンバ１０７を置換する能力は図１６において二方向矢印ＡＵによって示される。
【０２０６】
　絶縁性の真空気密フィードスルー１０３はこの場合（図１６には図示せず）においては
残りのハウジング部分１０１aまたは測定チャンバ１０７上に設けられ得る。後者の場合
、言及されたフィードスルー１０３上において通って送られる電極も測定チャンバ１０７
とともに置換される。
【０２０７】
　図１７において単純化された概略的な形式で示される実施の形態においては、測定チャ
ンバ１０７はハウジング１０１内に測定気体フィッティング８の側において挿入され、そ
こにおいて固定される。提供される磁化構成の場合において、説明されたように、ハウジ
ング１０１における測定チャンバ１０７の十分な本来の固定は、それによって既に製造さ
れていることが多い。フィードスルー１０３は、この実施の形態においても、ハウジング
１０１または置換可能な測定チャンバ１０７に固定的に接続され得る。
【０２０８】
　好ましくはハウジング１０１上の停止部に挿入される測定チャンバ１０７のさらなるロ
ックがある場合には、これは、ハウジング１０１の壁部を通るロックリングもしくはボル
トまたはボールキャッチ接続などのようなロック手段によって実現され得る。
【０２０９】
　既に述べられたように、絶縁性の真空気密フィードスルー１０３は汚染に関して極端に
感度が高い。図１８において極端に単純化された概略的な形式で示されるように、置換可
能な測定チャンバ１０７が上記のフィードスルー１０３を含まず、後者がハウジング１０
１に固定的に接続される場合には、図１８において１０４で示される、送られるロッドも
、いずれの場合にしても、絶縁された態様で、測定チャンバ１０７内に、そこにおける電
離空間内に導入されなければならない。この目的のため、絶縁性であるだけであり、真空
気密ではないフィードスルー１０９が測定チャンバ１０７上に設けられることになる。絶
縁性であるのみであるフィードスルー１０９はしたがって軸７およびしたがって測定チャ
ンバ１０７上のフィードスルー１０３と同軸に設けられ、そこを通ってロッド１０４が深
く案内される。図１８では、測定セルは単なる一例として、陰極４Kおよび陽極３Aを有す
るペニングセルとして構築される。必要である場合には、測定チャンバ１０７を置換する
能力を確実にするために、図１８において１０６で概略的に示されるように、ロッド１０
４のセクションが取外し可能なプラグ接続によって結合され得る。
【０２１０】
　フィードスルー１０９が実際的にロッド１０４に対して押圧する状態であり、フィード
スルー１０３は電離空間からの汚染から非常に効果的に保護される。
【符号の説明】
【０２１１】



(38) JP 2017-198711 A 2017.11.2

　１　磁石、２　ヨーク、３，４　電極、５ａ，５ｂ，６　案内手段、７　軸、８　測定
フィッティング、９ａ，９ｂ　磁極、１１　封止フランジ、１６　電圧源、１７　電流測
定手段、２０　電離空間、３０　真空測定セル、３１，３２　開口部、３５　ウェブ、４
１　絶縁体、４２，６０　シリンダ、４３　金属フィッティング、４４　ロッド、４８　
真空センサ、６８　スナップリング、７０　磁石ホルダ、１０１　ハウジング、１０３　
フィードスルー、１０７　測定チャンバ。
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